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Patent verilerinin analizi teknolojinin ilerleme yoniiniin tespit edilmesi ve ticari
potansiyelin belirlenmesi amagh sik¢a kullanilan yontemlerden biridir. Literatiirde genel
olarak belli bir teknolojinin hangi bolgelerde agirlikla basvuru yapildigi veya tilkelerin
hangi teknolojilere agirlik verdigini analiz etmek amagh ¢aligmalar yiiriitiilmiistiir. Bir
anabilim dalina odaklanilarak patent verilerinin analiz edildigi bir calismaya
rastlanmamuistir.

Bu dogrultuda oncelikle uzaktan algilama ve cografi bilgi sistemleri alanindaki
teknolojilerin CPC (ortak patent siniflandirmasi) patent siniflar belirlenmis siniflarinin
belirlenmesinin ardindan 2000-2023 yillar1 arasinda yapilmis Avrupa patent sistemi ile
yapilmig bagvuru ve tescil sayilart Derwent Innovation ve Patbase veri tabanindan elde
edilmistir. Elde edilen bu veriler Avrupa patent 6zelinde yillara gore bagvuru ve tescil
sayilari, en fazla bagvuru yapilan iilkeler ve bu siiflarda en fazla bagvuru yapan firmalar
analiz edilecek sekilde incelenmistir.

Yapilan c¢alisma sonrast UA ve CBS alaninda yapilan patent bagvurularinin 2009
yilt ile hiz kazandig1, 2019 yilinda zirve yaparak sonrasinda azaldigi, tescil sayilarinin
2000’11 yillarin basinda ¢ok diisiik seviyede oldugu, 2015 yilindan sonra hizla arttigim
2022 yilinda belirgin bir diisiis yasayip tekrar artmaya basladigi tespit edilmistir. Ayrica
UA ve CBS alaninda yapilan bu smiflardaki basvurularin yogunlukla Avrupa patent
basvurusu, Almanya ve Japonya iken bagvuru yapan firmalarin genel olarak otomotiv
sektorii ve bilisim sektdriinde faaliyet gosteren firmalar oldugu gortilmiistiir.

Anahtar Sézciikler: Uzaktan algilama, Cografi bilgi sistemleri, Avrupa patent sistemi,
Patent analizi.



ABSTRACT

ANALYSIS OF PATENT STATISTICS IN THE FIELD OF REMOTE SENSING
AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS: EUROPEAN PATENT
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Analysis of patent data is one of the frequently used methods to determine the
direction of advancement of technology and the potential of the commerce. In the
literature, studies have generally been carried out to analyse in which regions a certain
technology is mostly used or on which technologies countries focus. No study that
analyses patent data by focusing on a department has been found.

Accordingly, first, the CPC (common patent classification) patent classes of
technologies in the field of remote sensing and geographic information systems are
determined, and then the number of applications and registrations made with the
European patent system between 2000 and 2023 were obtained from Derwent
Innovation and Patbase database. These data were examined to analyse the number of
applications and registrations for European patents by year, the countries with the most
applications, and the companies with the most applications in these classes.

The study showed that patent applications in the field of RS and GIS
accelerated in 2009, peaked in 2019 and then decreased, the number of registrations
was at a very low level in the early 2000s, increased rapidly after 2015, experienced a
significant decrease in 2022 and started to increase again. Furthermore, when the
classes of patent applications made in the fields of RS and GIS are examined, it is
seen that European patent applications, German applications and Japan applications
take the lead, respectively, and the companies that apply are generally companies
operating in the automotive and IT sectors.

Keywords: Remote sensing, Geographic information systems, European patent system,
Patent analysis.
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1. GIRIS

Bu tez kapsaminda, Uzaktan Algilama ve Cografi Bilgi Sistemleri alaninda Avrupa
Patent Sistemi ile yapilan bagvurularin 2000 ile 2023 yillari arasindaki verileri incelenmis
ve cesitli istatistiksel analizler gergeklestirilmistir. Bu analizler, UA ve CBS
teknolojilerinin yillara gore gelisimi, ticari potansiyelinin {ilkelerin ve firmalarin ilgili

teknolojilerde Avrupa patent sistemi baglaminda degerlendirilmesini amag¢lamaktadir.

Patent istatistiklerine dayali olarak yapilan bu c¢alisma, UA ve CBS alaninda
Avrupa patent bagvurularmin hangi teknolojik alanlarda yogunlastigini ve hangi
sektorlerde daha fazla kullanimin oldugunu ortaya koymaktadir. Ayrica bu alanda en

fazla bagvuruda bulunan firmalarin analizi de yapilmistir.

Patent, genel olarak bir seyi yapmanin yeni bir yolunu saglayan veya bir soruna
yeni bir teknik ¢6zlim sunan bir iiriin veya siire¢ olan bir bulus i¢in verilen miinhasir bir
haktir [1]. Bagka bir deyisle patent miinhasir hak olarak basvuru sahibine, baskalarinin
bulusa konu teknoloji 6zelinde Ar-Ge calismalari harig ticari bir amagla bulusa konu
teknoloji Ozelinde {retilmemesi, bagka bir {riiniin iiretiminde kullanilamamasi,

satitlamamasi ve ithalat yoluyla dagitilamamasi anlamina hakkini tanimaktadir.

Bu haklar patent sahiplerine belirli bir siireligine bolgesel veya {ilkesel verilen
haklardir. Prensip olarak bu miinhasir haklar yalnizca patentin korundugu iilke/iilkelerde
gecerlidir. Genel olarak patentler icin korunmasi talep edilen {lilkeler yukarida ifade
edildigi gibi tanidigi miinhasir haklar sebebi ile patente konu teknolojinin ticari
potansiyeli olan {ilkelerdir. Bu sebeple Avrupa patent basvurusu disinda yapilan

bagvurular da incelenerek ticari potansiyeli olabilecek tilkeler belirlenmeye ¢alisiimistir.

Patent verilerinin sadece ticari bakis acisiyla ele alinmasi eksik bir degerlendirme
olacaktir. Patent verilerinin sadece ticari bakis agsiyla ele almak yerine daha kapsamli bir
bakis acisiyla degerlendirilmesi 6nemlidir. Clinkii bu veriler ayn1 zamanda énemli teknik
bilgileri icermekte ve Ar-Ge faaliyetlerini yonlendirici, inovasyonu tesvik edici bir arag
olarak da kullanilabilmektedir. Patent veri tabanlarindaki bilgilerin mevcut teknik
bilginin biiylik bir kismin1 kapsadig1 géz oniline alindiginda, bunlarin Ar-Ge siireglerini

sekillendirmede kritik bir rol oynadig: aciktir.



1.1. Amag¢ ve Kapsam

Bu calismanin esas amaci, Uzaktan Algilama ve Cografi Bilgi Sistemleri (UA ve
CBS) alaninda yapilan patentlerin analizi yoluyla bu teknolojik gelismeleri nicel olarak
anlamaya c¢alismaktir. Bu c¢alismanin amaci, Uzaktan Algilama ve Cografi Bilgi
Sistemleri (UA ve CBS) alaninda yapilan patentlerin nicel olarak analiz edilerek alandaki
belirlenen degiskenlere gore yogunlastigi noktalari, teknolojik gelismeleri, yenilik ve
potansiyelleri anlamaya g¢alismaktir. Bu amag¢ dogrultusunda, Avrupa patent sistemi
icinde, patent siniflandirma sistemine dayali bir analiz gergeklestirilmistir. Bu analiz, UA
ve CBS alaninda yapilan bagvuru sayilarini, bu basvurularin hangi teknolojik alanlara ait
oldugunu ve hangi koruma kapsamina sahip oldugunu belirlemeyi hedeflemektedir.

Patent analizlerinin birden fazla amaci oldugu gibi birden fazla da yontemi
bulunmaktadir. Patent analizi c¢alismalarinin c¢ok farkli amaclar1 olabildigi gibi bu
calismalar farkli yontemler ile de yiiritilebilmektedir. Bu analizler iki ana grupta
toplanabilir. Bunlardan ilki teknolojik alanda yapilmis basvurularin tarifnamelerinin
(patent basvurusu dokiimani) teknik ac¢idan analiz edilmesidir. Bu analiz yontemi
genellikle Ar-Ge caligmalarinin tespit edilmesi, yonlendirilmesi ve kullanim serbestligi
olarak adlandirilan patent ihlalinden sakinilmasi gerektigi durumlarda kullanilmaktadir.
Bir diger analiz yontemi ise genel olarak istatistiki veriler kullanilarak yapilan koruma
kapsamin1 belirleyerek ticari potansiyeli belirleme, teknolojinin hangi smiflarda
yogunlastig1 tespit edilerek teknoloji yol haritalarim1 ¢ikarma gibi sayisal veriler ile
yapilan analizlerdir. Istatistiki veriler ile yapilan analiz teknoloji alaninda yapilan
yenilikleri ve trendleri anlamak i¢in kullanilan 6nemli yontemlerden biri oldugu i¢in
mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel firsatlar1 degerlendirme amagh firmalar ve
aragtirmacilar i¢in 6nem arz etmektedir. Ayrica belirli bir teknoloji veya sektordeki patent
aktivitesini analiz etmek yatirinm kararlarint  yOnlendirmek ic¢in kullanilan
enstriimanlardan biridir.

Bu tez kapsaminda istatistiki verilerin analizi yontemi kullanilmis olup patent
istatistikleri analiz edilerek hazirlanan bu tezin iki temel amaci bulunmaktadir.

Birinci amag; UA ve CBS alaninda yapilan Avrupa patent sistemi ile yapilmis
basvurularinin yogunlukla hangi teknoloji siniflarinda oldugu ve buna bagli olarak
yapilan bagvurularin ve tescil sayilarinin analiz edilmesidir.

Bir diger amaci ise belirlenen teknoloji siniflarina gére Avrupa patent sistemi ile

diger iilkelerde yapilan basvuru sayilarinin karsilastirilmasi ve bu simiflardaki en ¢ok



bagvuru yapan firmalar tespit edilerek UA ve CBS teknolojilerinin ticari potansiyelinin
yorumlanmasidir.
1.2. Arastirma Sorulari

Bu tezin amacit kapsaminda asagidaki arastirma sorulari belirlenmis,
onceliklendirilmis ve aragtirma sorularinin amaglarina goére veri analizi yapilmistir.
Calismaya iligkin ana aragtirma sorusu su sekilde tanimlanabilir:

*UA ve CBS alaninda yapilan patent bagvurulari hangi CPC siflarini
kapsamaktadir?

Patent siniflandirmasi, patent verileri arastirilirken ilgili alanda yapilmig patent
basvurularinin tespit edilmesi i¢in arastirmada kolaylik saglayan bir gruplandirma
yontemi onermektedir. IPC yani Uluslararas: Patent Siniflandirmas: Tiirkiye ve bir¢ok
tilkenin taraf oldugu Strasburg Anlasmasi kapsaminda faydali model ve patentlerin
teknolojik alanlarina goére gruplandirarak iilkeler arasindaki karigikligi ortadan kaldirmak
icin yapilmig bir sistemdir. 1 Ocak 2013 tarthinde yiiriirliige giren Ortak Patent
Siniflandirmasi (CPC) ise, ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ile Avrupa Patent Ofisi
(EPO) arasinda kendi mevcut smiflandirma sistemlerini uyumlu hale getirmeyi
kararlastirdiklart ortak bir igbirligi olarak baglatilmistir. Bu iki Ofis tarafindan
gelistirilmis olan CPC, biiyiik 61¢iide EPO’nun Avrupa Siniflandirma Sistemi’ne (ECLA)
dayanmaktadir [2].

“UA ve CBS alaninda yapilan patent bagvurular1 hangi CPC smiflarini
kapsamaktadir?” arastirma sorusu bu calisma kapsaminda 3.2. altinda yer alan “UA ve
CBS Verilerinin Elde Edilmesi” basligindaki ¢alismalarin temelini olusturmaktadir. Bu
amagla yapilan analiz kapsaminda elde edilen veriler diger analizler icin yapilacak
arastirmalarin gruplandirilmasi ve sinirlandirilmasina olanak saglayacaktir.

Birinci amag kapsaminda olusturulan arastirma sorulart;

* UA ve CBS alanindaki belirlenen siniflarda 2000-2023 tarih araliinda yapilmis
Avrupa patent bagvurulariin siif bazinda yogunlugu nasildir?

Patent siniflandirma yontemine gére CPC 9 ana boliim ve her boliimiin altinda yer
alan alt basliklara gore gruplandirilmistir. Bu gruplandirmalar 9 ana boliim ile baglantili
uzman kisiler tarafindan olusturulmus ve kabul gérmiis gruplandirmalardir. “Hangi CPC
smiflarinda yogunlukla bagvuru yapilmis?” sorusu UA ve CBS alanindaki teknolojik

gelismelerin hangi yonde oldugunun tespiti i¢in dnem arz etmektedir.



* UA ve CBS alanindaki belirlenen siniflarda 2000-2023 tarih araliinda yapilmis
Avrupa patent basvurularinin sinif bazinda tescil sayilarinin bagvuru sayilarina orani
nedir?

Patent basvurular1 bulusun ilgili oldugu uzmanlar tarafindan incelenmekte ve
yenilik, bulus basamag1 ve sanayide uygulanabilirlik kriterlerini saglayan buluslar tescil
belgesi almaya hak kazanmaktadir. Dolayist ile her patent bagvurusu tescil ile
sonu¢lanmamaktadir. Tescil ile sonuglanan basgvurularin inovatif, yenilik¢i yoniiniin fazla
oldugu seklinde yorumlanmas1 miimkiindiir. Bu arastirma sorusu kapsaminda belirlenen
CPC siniflar1 i¢in 2000-2023 yillar1 arasindaki tescil sayilari belirlenerek bagvuru sayilari
ile karsilastirilacak ve yorumlanmaya ¢aligilacaktir

Ikinci amag kapsaminda olusturulan arastirma sorular;

* UA ve CBS alanindaki belirlenen siniflarda 2000-2023 tarih araliinda yapilmis
Avrupa patent basvurulariin yillara gére bagvuru yogunlugu nasildir?

figili CPC smflarmin hangi yillarda yogunlukla yapildigi tespit edilerek
teknolojinin trend konular arasinda olup olmadig1 yorumlanabilmektedir. Bu amacla ilgili
siiflardaki bagvuru sayilar1 incelenerek o alandaki bagvurularin teknolojik gelisimi
yorumlanabilecektir.

* UA ve CBS alanindaki belirlenen siniflarda 2000-2023 tarih araliginda Avrupa
patent sistemi ve diger iilkelerin bagvuru sayisindaki dagilimi nasildir?

Patentler bolgesel haklardir ve tanimis oldugu miinhasir haklar patent
bagvurusunun yapildig: ve verildigi {lilkenin mevzuatlarina gore o iilke veya iilkelerde
gecerlilik saglamaktadir. Bu iilkeler belirlenirken ticari potansiyeli oldugu diisiiniilen
veya bilinen iilkeler tercih edilmektedir. Bagvuru yapilan iilkelerin dagilimi nedir sorusu
ile analiz edilen smiflardaki ticarilestirme c¢aligmalarinin yogun oldugu iilkeler tespit
edilmeye ¢aligilacaktir.

* UA ve CBS alanindaki belirlenen siniflarda 2000-2023 tarih araliginda Avrupa
patent sistemi ile en fazla bagvuru firmalar hangileridir?

Patent bagvurular1 gercek veya tiizel kisiler tarafindan yapilan bagvurulardir. Tiizel
kisiler arasinda yer alan firmalar/kurumlar ticarilestirdikleri buluslar i¢in miinhasir
haklardan faydalanarak rakiplerinin ilgili alanda tliretim/satis yapmasini1 énlemek amacli
patent basvurulart yapmaktadir. Firmalarin, Ar-Ge c¢aligmalarinin hangi alanda

yogunlastigini tespit etmek i¢in patent basvurularinin arastirilmasi kullanilan 6nemli



enstriimanlardan biridir. “En fazla bagvuru yapan firmalar hangileridir?” aragtirma sorusu

ile ilgili siniflarda yogunlukta Ar-Ge ¢alismasi yapan firmalar belirlenmeye calisilmigtir.

1.3. Simirhliklar

Patent basvurulart 6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu (SMK) 97. Maddesinin 1.
fikrasinda da belirtildigi lizere; Basvuru veya varsa riighan tarihinden itibaren on sekiz
aylik siirenin dolmasi veya bu siire dolmadan bagvuru sahibinin erken yayim talebi
lizerine, patent veya faydali model bagvurusu biiltende yayimlanir [3]. Tez kapsaminda
yiiriitiilen arastirma, patent veri tabanlarindan yapilmis olup mevzuat geregince son 18 ay
icerisinde yapilmis patent bagvurularina (erken yayin talep edilenler hari¢) ulagilamamus,
sadece yayinlanan patent basvurular1 arastirma siirecine dahil edilebilmistir. Tez
kapsaminda 2000-2023 tarih aralifinda ilgili siniflarda yapilan basvurular {izerinden
analizler yapilmistir. 2023 yilindaki ve 2022 yilinin son ¢eyregindeki bagvuru verilerden

sadece erken yayin talebi ile yayinlananlara ulagilmistir.

1.4. Temel Kavramlar

Bu boliimde, ¢alismanin kapsamini olusturan patent basgvuru ve tescil siireglerinde
kullanilan temel kavramlar ve terimlerin agiklamalarina yer verilmistir.

Patent bagvuru siireci, bir bulusun resmi olarak taninmasi ve korunmasi i¢in izlenen
adimlar igermektedir icerir. Bu siire¢, bagvurunun yapildig: tilkenin patent ofisi veya
benzer bir kurulusu aracihifiyla ve o ilkenin mevzuatlarina uygun olarak
gergeklestirilmektedir.

Temel kavramlarin anlasilmasi, ¢aligmanin ilerleyen boliimlerinde ele alinacak
patent verilerinin analizi ve yorumlanmasi kisminin anlagilmasi agisindan énemli olarak

degerlendirmistir.

1.4.1. Patent kavrami ve tarihcesi

Patent kavrami sinai miilkiyet kavraminin altinda yer alan ve buluslarin korunmasi
icin gercek veya tiizel kisilere verilen tekel bir haktir. "Ac¢ik olmak" anlamindaki latince
kokenli "patere" fiilinden gelen patent kavrami, bu alanda ilk pozitif metin olan 1879
tarihli ihtira Berati Kanunu'da "ihtira berat1" seklinde ifade edilmistir [4]. Bu hak
basvuruya dayali bir sistem ile korunmakta olup Tiirkiye’de Tiirk Patent tarafindan
yuriitiilmektedir. Tiirk Patent tarafindan yiiriitiilen bu siireglerde iilkemiz mevzuatlar
gecerli olup her iilkenin siiregleri ve mevzuatlar1 temelde benzer olsa da farklilik da

mevcuttur.



Ik patent kanunu Venedik’te 1474’te kabul edilmesine karsin, sistemin
kanunlasmasi, yerlesmesi ve gelismesinde Ingiltere’nin dncii oldugu goriilmektedir [5].
Tiirkiye’de ise sinai miilkiyetin temeli Osmanli donemine dayanmaktadir. Her ne kadar
Osmanli doneminde herhangi bir yasal diizenleme bulunmasa da tiiccarlar arasinda
mesleki bilgi birikimlerinin korunmast amaclh kisiler arasinda gizlilik sézlesmeleri
imzalandig1 boylelikle haklarin bir sekilde korunmaya c¢alisildigi goriilmektedir.
Cumhuriyet’in kurulusu ile iilkemizde hukuki diizenlemeler yapilmaya baslanmis fakat
smai miilki haklar i¢in ¢alismalar bu yillarda da hentiiz baslatilmamustir. Patent konusunda
yapilan ilk adimlar 1940’11 yillarin basinda baslatilmis olup patent, tasarim, marka gibi
temel tanimlar ile ilgili yenilik¢i adimlar yine bu yillarda atilmaya baslanmistir.

1995 yilinda Trade Related Aspect of Intellectual Property (Ticaretle Baglantili
Fikri Miilkiyet Haklar) (TRIPS) anlagmasma taraf olan Tiirkiye, boylelikle siai
miilkiyetin diinya ticaretinde korunmasini saglayarak énemli bir adim atmigtir.

10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayili Siai Miilkiyet Kanunu yiiriirliige girmis ve bu
Kanunla Tiirk sinai miilkiyet mevzuatinin uluslararas1 anlagmalara ve AB mevzuatina
uyumu artirilmis ve TURKPATENT in kurumsal yapisi giiglendirilmistir [6].

Ulkemizde Tiirk Patent ve Marka Kurumu tarafindan takip edilen smnai haklar
kapsaminda buluslar, markalar, tasarimlar, cografi isaretler ve benzeri entelektiiel

miilkiyet denilen unsurlar koruma altina alinmaktadir.

1.4.2. Fikri ve sinai miilki haklar

Insan diisiincesi sonras1 ortaya c¢ikan ve yenilik iceren fikir iiriinlerinden dogan
haklar en genel anlamda “fikri miilkiyet” olarak tanimlanmaktadir. Tanimdan da
anlasilacag1 tlizere fikri haklar, genis bir tanimi igermekte ve bircok fikir iirlinlinii
blinyesinde barindirmaktadir.

Telif haklari; giizel sanatlar, ilim ve edebiyat, sinema ve musiki eserler olmak tizere
4 grupta degerlendirilmektedir. Bu haklar da patentlerde oldugu gibi “sahiplerine
miinhasir haklar” tanimaktadir. Telif haklari, ortaya ¢iktigi an itibari ile kendiliginden
eser yaraticisina miinhasir hak tanimaktadir. Yani telif haklari i¢in bir bagvuru sistemi
zorunlu olmamakla birlikte istege baglh olarak Kiiltiir ve Turizm Bakanligi tarafindan
sinai haklardan farkli bir mevzuat ile yiirlitilen ve farkli siirecler ile basvuru
yapilabilmektedir.

Sinai haklar ise telif haklarindan farkli olarak bir tescil prosediirii ile yiiriitiilen

basvuruya esas olarak taninan miinhasir haklardir ve bu basvuru siiregleri ilkemizde Tiirk
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Patent nezdinde yiiriitiilmektedir. Sinai haklar; patent, marka, tasarim, entegre devre
topografyalar1, cografi isaret, geleneksel iiriin ad1 ve yeni bitki gesitleri gibi 6zgiin
caligmalar1 kapsamaktadir.

1.4.3. Bulus, yenilik, bulus basamag, sanayide uygulanabilirlik ve faydali model
kavramlari

Bulus, genel hatlariyla mevcuttaki bir {iriin veya yontem iizerinde tespit edilen bir
probleme teknik bir sekilde yeni bir ¢6ziim getiren veya bir {iriinli yapmanin yeni yolunu
bulan iiriin veya yontem olarak ifade edilmektedir. Yani bulus, mevcuttaki bir iiriin veya
yontem iizerinde yapilabildigi gibi yeni bir iiriin olarak da gerceklestirilebilir. Buluglarin
patentlenebilirlik kriteri saglamasi i¢in yenilik, bulus basamagi ve sanayide
uygulanabilirlik kriterlerini saglamasi beklenmektedir. Patent bagvurular1 yapildiktan
sonra yenilik, bulus basamagi kriterlerini icerip icermediginin tespiti i¢in uzmanlar
tarafindan arastirma raporu, inceleme raporu gibi teknigin bilinen durumu ile
karsilastirma yapilan siire¢lerden gegmektedir. Bu siiregler sonrasinda raporlarin olumlu
gelmesi ile tescil karar1 verilmekte ve boylelikle bulusa konu teknolojinin patent olarak
tescil ile belgelenmesi karar1 verilmektedir.

Yenilik, SMK’nin 83. Maddesinin bir ve ii¢iincii fikralarina gore “teknigin bilinen
durumuna dahil olmayan bulusun yeni oldugu kabul edilir ”. “Teknigin bilinen durumu”
olarak ifade edilen kavram, diinyanin herhangi bir yerinde ifsa edilmemis olmasi
anlamina gelmektedir.

Bulug basamagi, SMK’nin 83. Maddesinin dordiincii fikrasina gore ve EPC 56.
Maddesinde belirtildigi sekli ile “ilgili oldugu teknik alandaki uzman kisiye gore asikar
olmamasi durumu ” olarak tanimlanmaktadir.

Sanayide uygulanabilirlik, SMK’nin 83. Maddesinin altinc1 fikrasina gore “bulus
tarim dahil sanayinin herhangi bir alaninda tiretilebilir veya kullanilabilir nitelikteyse”,
sanayide uygulanabilir olarak degerlendirilmektedir.

Faydali model, patentlenebilirlik kriterleri igerisinden yenilik ve bulus basamagi
kriterlerini saglayan patentten farkli olarak bulus basamagi kriteri aranmayan ve
patentlere gore daha az siirede (10 yil) koruma saglayan buluslara verilen belgedir.
Kimyasal maddeler ve usuller ile yapilan buluslar faydali model kapsaminda

degerlendirilmemektedir.



2. KURAMSAL TEMELLER

Bu béliimde, patent verileri kullanilarak gergeklestirilen arastirmalar ve ulusal ile
uluslararasi patent basvurularinin korunmasi i¢in bagvuru oncesi siirecler ve koruma
yontemleri ele alimmustir. Bu siiregler, bulusa konu teknolojinin o6zelligine gore
degerlendirilmekte ve koruma stratejileri, bulusun ticari degerine bagli olarak
belirlenmektedir.

Patent verilerinin analizi, arastirmacilara mevcut teknolojik gelismeleri anlama ve
gelecekteki inovasyon yonlerini belirleme konusunda onemli bir kaynak saglamaktadir.
Ayrica ulusal ve uluslararast patent basvuru siireclerinin anlasilmasi, bulus sahiplerine
buluslarin1 koruma ve ticarilestirme konusunda rehberlik etmesi agisindan da kritik bir
rol oynamaktadir. Bagvuru dncesi siirecler, patentin bagvuru asamasinda karsilasabilecek
potansiyel sorunlari 6nlemeye ve basvurunun kabul edilme sansini artirmaya yonelik
adimlar icerir kapsamaktadir.

Koruma yontemleri ise, bulusun ticari degerine ve endistriyel uygulamalarina gore
belirlenir sekillenmektedir. Bu yoOntemler, patentin kapsamini genisletme, benzer
buluslardan farklilasma ve rekabet avantaj1 elde etme amacini tasimaktadir. Sonug olarak
bu boliim, patent verilerinin analiz edilmesi ve patent bagvuru siireglerinin anlagilmasi
yoluyla bulus sahiplerinin teknolojik inovasyonlarint koruma ve ticarilestirme
stratejilerini belirleme konusunda yol gostermektedir.

2.1. Literatiir Ozeti

Giincel literatiirde, sektor o6zelinde hangi teknolojilerin belirli donemlerde one
ciktigini ve belirli alanlarda teknolojik gelisimlerin nasil gergeklestigini arastirmak i¢in
patent veri tabanlarindan yararlanarak ve cesitli yontemler kullanilarak bir¢ok calisma
yuriitiildiigli goriilmistiir. Bu aragtirmalar genellikle bir sektorde hangi teknolojilerin
oncelikli olarak kullanildigin1 belirlemek veya belirli bir bolgedeki teknolojik trendleri
anlamak amaciyla gergeklestirilmistir. Buna ek olarak, bolgesel analizlerde incelenen
teknolojilerin inovasyonu nasil tesvik ettigi veya teknolojik ¢aligmalarin hangi yonlere
ilham verdigi gibi konular1 arastiran ¢alismalara da sikca rastlanmistir.

Baspinar (2009), insaat sektoriinde ulusal ve uluslararasi kaynaklardan elde edilen
verileri kullanarak 1979-2007 arasindaki belirli bir zaman diliminde yapilan patent
basvurularini incelemistir. Analizlerine gore 1980'lerde patent basvuru sayilarinin
oldukga diisiik seviyelerde oldugunu tespit etmis, ancak 2000'li y1llarda bu sayida dnemli

bir artis yasandigini belirtmistir. Ayrica bagvurularin yogunlukla ABD ve Almanya'da



yapildigin1 gozlemlemis ve bu bilgiden hareketle bu iilkelerin insaat sektoriinde oncii
konumda oldugunu yorumlamaistir [7].

Yuan ve Li tarafindan 2021 yilinda gergeklestirilen aragtirmada, akiilii elektrikli
araclarin ulusal patent bagvurularin1 belirlemek amaciyla patent verilerinden
yararlanmigtir. Bu bagvurularin koruma kapsaminin hangi iilkeler dahilinde oldugunu
tespit ederek, elektrikli araglar alanindaki teknolojilerin yayilimini haritalandirmislardir.
Aragtirma, teknoloji kaynaklarinin elektrikli araglarla ilgili bir veya birkag¢ bolgede
yogunlastigini, ancak bu yayilimin diizensiz oldugunu ortaya koymustur [8].

Ispanya ve Bask bolgesinde yapilan patent basvurularmm 2015 yilindaki
analizinde, Cilleruelo, Garechana ve Larruscain tarafindan teknoloji siniflar1 belirlenmis
ve bolgenin uzmanlik alanlari nicel verilere dayali olarak incelenmistir. IPC siniflar1 ve
anahtar kelimeler temel alinarak yapilan bu analiz, bindirme ydntemiyle teknolojilerin
haritalandirilmasin1  saglamistir. Elde edilen sonuglara gére, Ispanya'da teknolojik
gelismelerin ilag ve tibbi kimyasallar alaninda oldugu gozlemlenirken, makine ve metal
isleme sektorlerinde ilerlemelerin Bask bolgesinde oldugu kaydedilmistir [9].

Avrupa patent verileri kullanilarak yapilan bir diger arastirmada arastirmacilar 1977
ve 1995 yillar arasinda yapilan Avrupa Patent bagvurusu ve Ar-Ge verilerini kullanarak
teknolojinin yayilimini incelemislerdir. Bunun neticesinde yenilik ve Ar-Ge kiiltiirii
yaytliminin lokalize oldugunu tespit etmislerdir. Bunun neticesinde Ar-Ge
harcamalarinin iki katina ¢ikarilarak diger bolgelerdeki yayilimimi %2-3 oraninda
arttirabilecegini 6ne siirmiislerdir [10].

Baska bir arastirmada, IDAT olarak ifade edilen Insansi1z Deniz Araci Teknolojileri
ile ilgili patentler incelenerek, IDAT igin teknoloji yasam dongiisii belirlenmis ve mevcut
durum degerlendirilmistir. Bu ¢alisma, teknolojiye yonelik yatirim olanaklarini analiz
etmek lizere patent sayilarindan yararlanmis ve ardindan sosyal ag analizi yontemiyle bir
teknoloji ag1 olusturulmustur. IDAT'larin  kullaniminda bulunan teknolojiler
gruplandirilmis ve her bir teknoloji i¢in potansiyel 6neme sahip ¢alismalar ¢ikarilmigtir.
Sonug olarak yapilan basvurularmn IDAT'larla iliskili olarak tasima kismindaki
teknolojilere odaklandig: belirlenmistir [11].

Mcaleer ve Slotthe, 2005 yilinda yaptiklar1 ¢alismada patent inovasyon iliskisine
odaklanmis, inovasyonun Ol¢lilmesi amaciyla "patent basar1 oran1" adin1 verdikleri bir
yontem gelistirmislerdir. Bu yontemde, toplam yapilan patent basvuru sayis1 ve tescil

edilen patent sayiss1 kullanilarak tescil oran1 hesaplanarak bir 6lglim elde edilmistir.



Arastirmacilar, bu yontemi 1850-2001 yillar1 arasindaki tiim ABD patent basvurulari
tizerinde uygulamislardir [12].

2010 yilinda yapilan farkli bir ¢alismada arastirmacilar uzman bilgisine ihtiyag
duymadan patent trendlerindeki degisiklikleri tanimlayabilen bir patent trendi degisiklik
madenciligi (PTCM) yaklasimi Onermisler ve bu yontemi Tayvan’in yari iletken
endistrisine uygulamiglardir. Patentlerin toplanmasi, patent gostergelerinin hesaplanmasi
ve degisikliklerin tespit edilmesi adimlardan olusan bu yontem ile teknolojiler i¢in kisisel
goriislerden bagimsiz ve sistematik oldugunu belirttikleri bir yontem sunmuslardir [13].

Patent verileriyle yapilan arastirmalar uluslararasi alanda oldukg¢a yayginken,
Tiirkiye'de patent istatistiklerini kullanarak teknolojik gelismelerin belirlenmesi ve
bolgesel yogunluklarin tespit edilerek haritalarinin olusturulmasi amagl ¢aligmalarin
gorece az oldugu gozlemlenmektedir. Bu c¢alismalar genellikle, teknolojilerin
performanslarinin dl¢lilmesi ve bdlgesel inovasyon kapasitesinin tespit edilmesi gibi
teknolojiye yonelik stratejik caligmalar olarak bilinmektedir. Yapilan arastirmada ise
literatiirden farkli bir yaklasimla, belirli bir ana disiplin odakli olarak yapilan patent

basvurulari ve tescil edilme durumlari incelenmis, yorumlanmaya ¢alisilmistir.

2.2. Ulusal ve Uluslararasi Patent Siirecleri
Ulusal patent basvurular1 yalnizca basvurunun yapildig: iilkede gegerli olup o

ilkenin mevzuatlaria tabi olarak yiiriitilmekte ve korunmaktadir. Bu sebeple bulusa
konu teknolojinin korunmasi i¢in siire¢, kapsam ve maliyet degerlendirmesi yapilarak
koruma stratejileri belirlenmelidir. Bulusun korunma siireci bagvuru oncesi siiregler ve
basvuru siiregleri olarak ikiye ayrilabilir.
2.2.1. Basvuru oncesi siirecler
Patent bagvurular1 maliyeti yiiksek ve nitelikli zaman ayrilmasi gereken siireglerdir. Bu
sebeple bulusa konu bir ¢alismanin patentlenebilirlik kriterlerini degerlendirmek ve bu
kapsamda patent 0n arastirmasi yapmak ilk ve en 6nemli basamaklardan biridir. Yapilan
On aragtirma sonrasi patentlenebilirlik kriterleri igeren buluslar i¢in basvuru Oncesi
tarifname hazirliginin yapilmasi gerekmektedir.
2.2.1.1. Patent on arastirmast

Patent On arastirmalart Ar-Ge calismalarini yonlendirme, teknigin bilinen
durumunu tespit etme, kullanim serbestliginin arastirilmasi, teknolojinin gelisimini

inceleme ve olast stratejileri olusturma, rakip firma analizi gibi bir¢ok sebep ile
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yapilabilmektedir. Bu arasgtirmalarin yontemleri de birbirlerine gore farklilik
gostermektedir.

Yukarida belirtildigi lizere bir bulusun patentlenebilirlik kriterleri icerisinde yer
alan yenilik ve bulus basamagi kriterlerinin saglayip saglamadigini tespit etmek igin
teknigin bilinen durumunun arastirildig1 genel olarak anahtar kelime ve siniflandirma
yonteminin birlikte ise kosuldugu kullanildig1 bir arastirma yapilmaktadir. Yapilan 6n
arastirmanin olumlu olmasi yani bulusun yenilik ve bulus basamagi i¢ermesi durumunda

bir sonraki siire¢ olan tarifnamenin hazirlanmasi siirecine gegilmektedir.

2.2.1.2. Tarifnamenin hazirlanmasi

Yapilan patent 6n arastirma sonrasi yenilik ve bulug basamagi iceren buluslar icin
tarifname takimi olarak adlandirilan teknik bilgilerin yer aldig1 belgeler hazirlanmaktadir.
Bu belgeler; 6zet, tarifname, istemler ve varsa resimlerden olugmaktadir.

Tarifname igerisinde yapilan arastirma sonrasi tespit edilen teknigin bilinen durumu
anlatilmali buna gore yapilan bulus ile hangi teknik probleme nasil ¢éziim getirildigi
belirtilmelidir. Bu bilgilerin tim ayrintilar1 ile yazilmasi ve tarif edilmesi 6nemli bir
husustur.

Istemler, patent basvuru kapsaminda koruma altina alinmasi istenen unsurlarimn
aciklandigi kisimdir. Patent iizerinden elde edilen miinhasir haklar, istemler ile
belirlenmektedir.

Resimler, tarifname ve/veya istemlerde atifta bulunulan ¢izimler, grafikler vb
kisimlardan olusmaktadir.

Ozet kismi ise tarifnamenin, istemlerin ve bulusun ilgili oldugu teknik alan
konusunda genel bilgileri i¢eren kisimdir. Tarifname takiminin hazirlanmasi ile bagvuru
dosyalanarak bagvuru siireci gerceklestirilmektedir.

2.2.2. Basvuru siirecleri

Tarifname takiminin hazirlanmasi ile bagvuru siireci baslatilmaktadir. Bagvuru
dosyasinin hazirlanmas1 sonras1t bagvuru online sistem {izerinden yapilmaktadir.
Ulkemizde ulusal basvuru siireci TPMK web sitesinde yer alan “EPATS” arayiizii
tizerinden yapilmaktadir. Bagvuru esnasinda bulus sahipligi ve basvuru sahipligi ile ilgili
bilgiler doldurulmaktadir. Basvuru sahibi gercek veya tiizel kisi / kisilerden olabildigi
gibi bulus sahipligi sadece gercek kisi veya kisilerden olmalidir. Bagvuru sahibi bulug
tizerindeki maddi haklara yani baskasina kullandirma veya kullandirmama hakkina sahip

olan gergek veya tiizel kisiyi temsil etmektedir. Bulus sahipligi ise manevi haklara sahip
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olan bulusu gergeklestiren gergek kisi veya kisilerdir. Tanimdan da anlagilacagi iizere
basvuru sahibi ve bulus sahibi birden fazla kisi olabilmektedir.

Basvurular, bagvuru yapilan iilke veya bolgesel basvuru sitemine gore farkli
mevzuatlara tabidir ve basvuru yapildigi iilke veya bdlge kapsaminda miinhasir haklar
tanimaktadir. Bu bagvurular iilkeler bazinda ayri ayr1 yapilabildigi gibi anlagsmalara tabi

tilkeler bazinda bolgesel de yapilabilmektedir.

2.2.2.1. Ulusal basvuru siireci

Ulkemizde ulusal patent basvurulari, TPMK tarafindan 6769 sayili SMK
kapsaminda yiiriitiillmektedir. Bagvuru TPMK web sitesinde yer alan EPATS sistemi
tizerinden yapilmaktadir. Basvuru sonrasi siireg, tarifname takiminin hazirlanma
sartlarina uygunlugunun arastirildig: sekli uygunluk, yenilik kriterinin degerlendirildigi
arastirma raporu, bulus basamaginin degerlendirildigi inceleme raporu ve iigiincii
kisilerin itirazina agilan yayin kismi1 sonrasi siireglerin olumlu olmasi sonucu tescil karari
siireclerinden olusmaktadir. Ulkemizde yapilan patent bagvurularina TPMK web sitesi
tizerinden ulagilabilmektedir. Bagvuru yapildiktan sonraki asamalar basit sekli ile Gorsel
2.1°de verilen Ulusal patent basvuru siirecindeki gibidir.

Bu siirece gore yapilan patent O6n arastirmasina gore bulusun yenilik ve bulus
basmag kriterleri géz 6niinde bulundurularak tarifname takimi hazirlanir. Bulusun tiim
detaylarinin anlatildig1 ve ozet, tarifname, istemler ve varsa sekiller kismindan olusan
tarifname takimi ulusal patent ofisine basvuru belgesi ile online yapilir. Basvuru
dosyalandiktan sonra sekli uygunluk, arastirma ve inceleme raporlari ulusal ofis
tarafindan hazirlanir. Bu raporlart olumlu olmasi sonucunda bulus tescil belgesi alamaya
hak kazanir. Raporlarin olumsuz olmasi1 durumunda bulus i¢in goriis hazirlig1 yapilarak

bulusun yenilik ve/veya bulus basamagi igerdigi konusunda savunma yapilabilmektedir.
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Gorsel 2.1. Ulusal patent bagvuru stireci

2.2.2.2. Uluslararast basvuru siiregleri

Uluslararasi bagvuru her ne kadar iilkemizde ulusal basvuru sonrasi baslatilan bir
siire¢ olsa da mevzuatta bdyle bir sart bulunmamaktadir. Ulusal basvuru yapilmadan da
uluslararasi bagvuru yapilabilmektedir. Ulusal ve uluslararasi mevzuata gore ulusal fazda
yapilmis bir patent bagvurusu i¢in uluslararasi bagvurunun yapilmasi i¢in maksimum siire
12 aydir. Bu siirenin asilmasi durumunda uluslararast bagvuru yenilik kriterini
saglamamasi sebebi ile tescil karar1 verilememektedir.

Ulusal patent bagvurusu sonrasi riighan yani 6ncelik hakki ile uluslararasi bagvuru
yapilabilmektedir. Riichan, 6nceden elde edilen hak ile tanimlanan 6ncelik hakki olarak

ifade edilmektedir. Riichan hakki sadece patent bagvuru ile taninan bir hak olmamakla
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birlikte sergi riichani, yayin riichani gibi bulusun ifsa edilme sekline gore ¢esitleri de
bulunmaktadir.
2.2.2.3. Patent Is Birligi Antlasmast (PCT) bagvuru siireci

PCT uluslararast1 basvuru siireci, birden ¢ok iilkede basvuru yapmay1
kolaylastirmak amacli 157 iilke! tarafindan imzalanmis uluslararasi bir anlasmadir.
Tirkiye de bu anlagsmaya tiye iilkeler arasinda yer almaktadir. Bu anlasmanin temel amaci
uluslararasi diizeyde koordinasyonun saglanarak bagvurularin ilk agsamasi olan arastirma
rapor siirecinin tek bir kanaldan yiiriitiilmesidir.

PCT bagvurulart ulusal siiregclerde oldugu gibi tarifnamenin hazirlanarak
dosyalanmas: siireci ile baslamaktadir. Ulusal basvurusu yapilmis ve bu basvurudan
riichan almarak yapilan PCT basvurularinda tarifnamenin degistirilmeden Ingilizce
olarak hazirlanmasi ve dosyalanmasi gerekmektedir. Uluslararas1 bir bagvuru siireci
olmasina ragmen basvurular, ulusal kabul ofisi olan TPMK’ya yapilmaktadir. TPMK ise
aldig1 bagvuruyu WIPQO’ya iletmek suretiyle siireci baslatmaktadir.

PCT basvuru siireci, uluslararasi siire¢ ve ulusal faz siireci olmak tizere iki
asamadan olusmaktadir. Birinci asama olan uluslararasi siire¢ patent basvurusunun
yapilarak baslayan ve aragtirma raporu ile sonuglanan kisimdir. Uluslararasi arastirma ve
inceleme otorite kuruluslarindan biri tarafindan hazirlanmis olan arastirma raporu
anlagmaya liye 157 iilke tarafindan kabul gérmektedir. TPMK 2016 tarihinde Diinya Fikri
Miilkiyet Orgiitii tarafindan otorite kurulus olarak kabul edilmistir. Bu asamadan sonra
ikinci asama olan ulusal siire¢ baglamaktadir. Bu siiregte anlagsmaya dahil olan 157 iilke
icerisinden korunmak istenen iilkeler se¢ilerek iilkelere ulusal faz girisleri yapilmakta ve
bir sonraki basamak olan inceleme raporu her {ilkenin kendi ofisi tarafindan
hazirlanmaktadir. Ulkesel faz gegisi de denilen bu asamada iilkeler ilk basvuru tarihi veya
yayin tarihi kabul edilen riichan tarihinden itibaren genel olarak 30 ay igerisinde tercih
edilmelidir. Bazi ilkeler ve sistemler tarafindan bu siire 31 ay olarak belirlenmistir.

PCT’ye liye lilke listesi Tablo 2.1°de verilmistir.

1 Mart 2024 tarihindeki iiye iilke say1st
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Tablo 2.1. PCT sistemine iiye iilkeler

Ulke

Kod Kod Ulke Kod Ulke Kod Ulke
AE Birlesik Arap EC Ekvador LA Laos RO Romanya
Emirlikleri
AG Antigua Barbuda | EE Estonya LC Saint Lucia RS Sirbistan
AL Arnavutluk EG Misir LI Liechtenstein RU Rusya
AM Ermenistan ES Ispanya LK Sri Lanka RW Ruanda
AO Angola Fl Finlandiya LR Liberya SA Suudi
Arabistan
AT Avusturya FR Fransa LS Lesotho SC Seyseller
AU Avusturalya GA Gabon LT Litvanya SD Sudan
AZ Azerbaycan GB  Birlesik Krallik | LU Luksenburg SE Isveg
BA Bosna Hersek GD Grenada LV Letonya SG Singapur
BB Barbados GE Giircistan LY Libya Sl Slovenya
BE Bel¢ika GH Gana MA Fas SK Slovakya
BF Burkina Faso GM Gambiya MC Monaco SL Sierra Leone
BG Bulgaristan GN Gine MD Moldova SM San Marino
BH Bahreyn GQ  Ekvator Ginesi | ME Karadag SN Senegal
BJ Benin GR Yunanistan MG  Madagaskar ST Sao Tome ve
Principe
BN Brunei GT Guatemala MK  Makedonya sV El Salvador
Darussalam
BR Brezilya GW  Guinea-Bissau | ML Mali SY Suriye
BW Botswana HN Honduras MN  Mogolistan Sz Esvatini
BY Belarus HR Hirvatistan MR Moritanya TD Cad
Bz Belize HU Maceristan MT Malta TG Togo
CA Kanada ID Endonezya MU Mauritius TH Tayland
CF Orta Afrika IE Irlanda MW Malavi TJ Tacikistan
Cumhuriyeti
CG Kongo IL Israil MX Meksika ™ Tiirkmenistan
CH Isvigre IN Hindistan MY Malazya TN Tunus
Ci Fildisi Sahili 1Q Irak MZ Mozambik TR Tirkiye
CL Sili IR Iran NA Namibiya TT Trinidad ve
Tobago
CM Kamerun IS izlanda NE Nijer TZ Tanzanya
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Tablo 2.2. (Devam) PCT sistemine iiye iilkeler

Kod

Ulke

Kod Ulke Kod Ulke Kod Ulke
CN Cin IT Italya NG Nijerya UA Ukrayna
Co Kolombiya JM Jamaika NI Nikaragua UG Uganda
CR Kosta Rika JO Urdiin NL Hollanda us Amerika
CuU Kiiba JP Japonya NO Norveg uz Ozbekistan
Ccv Cabo Verde KE Kenya NZ  YeniZelanda | VC Saint Vincent
ve Grenadines

CYy Kibris KG Kirgizistan oM Umman VN Vietnam
Cz Cekya KH Kambogya PA Panama WS Samoa
DE Almanya KM Komorlar PE Peru ZA  Gilney Afrika
DJ Cibuti KN Saint Kitts ve PG Papua Yeni ZM Zambiya

Nevis Gine
DK Danimarka KP Kuzey Kore PH Filipinler ZW Zimbabve
DM Dominika KR Giiney Kore PL Polonya
DO Dominik KW Kuveyt PT Portekiz

Cunhuriyeti

Dz Cezayir KZ Kazakistan QA Katar

Tablo 2.1°de verilen PCT sistemine iiye lilkelerin harita {izerinde gosterimi Sekil

2.2°de verilmistir.
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Sekil 2.1. PCT sistemine tiye iilkelerin harita iizerinde gosterimi
PCT bagvuru sistemi uluslararasi bagvuru yapmak isteyen basvuru sahipleri i¢in
stireci basitlestiren ve koordine eden bir yapiya sahiptir. Ulusal bagvuru sistemine benzer
fakat birden fazla {ilkede yapilmasina olanak saglamak ve maliyeti diisiirmek icin

kolaylastirici bir siirece sahiptir. PCT basvuru siireci Gorsel 2.3’teki gibidir.
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Gorsel 2.2. PCT patent basvuru siireci

2.2.2.4. Avrupa patent bagvuru siireci

Avrupa patent basvuru sistemi EPO (Avrupa Patent Ofisi) tarafindan yiiriitiilen bir
sistemdir. Bu sistem, Avrupa’da patent bagvurulari i¢in standartlagtirmis ve siireci EPO
tizerinden koordine ederek kolaylastirilmis bir prosediir saglamaktadir. Bu sistemin temel
amac1, Avrupa’da tek bir basvuru ile Mart 2024 tarihi ile Tablo 2’de verilen 39 iiye iilke?

icin patent korumasi saglamak miimkiin hale gelmektedir. Tiirkiye’de 01 Kasim 2000

2 Mart 2024 tarihindeki iiye iilke sayist
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tarihinde anlagsmay1 imzalayarak 39 iiye iilke arasinda yerini almistir. Bu bagvurunun
gerceklestirilebilmesi i¢cin basvuru sahibinin Tablo 2.2°de yer alan Avrupa patent
sistemine iiye iilkelerin herhangi birinde yerlesik olmasi sartt aranmamaktadir.

Avrupa patent bagvuru sistemine gore basvurular, Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO)
yapilmaktadir ve tiim siirecler (arastirma ve inceleme raporlar1) yine EPO tarafindan
yiriitiilmektedir. Raporlarin olumlu olmasit sonrasinda patent bagvurusu tescil karart ile
sonuglanmaktadir. Tescilin iilkelerde gecerli olabilmesi i¢in 39 iilke igerisinden
korunmak istenen iilkeler belirlenerek {ilkelerde validasyon isleminin yapilmasi

gerekmektedir.

Tablo 2.3. Avrupa patent sistemine iiye iilkeler

Kod Ulke Kod Ulke Kod Ulke Kod Ulke
AL Arnavutluk ES Ispanya LI Liechtenstein PL Polonya
AT Avusturya Fl Finlandiya LT Litvanya PT Portekiz
BE Bel¢ika FR Fransa LU  Luksemburg RO Romanya
BG Bulgaristan GB  Birlesik Krallik | LV Letonya RS Sirbistan
CH Isvigre GR Yunanistan MC Monako SE Isvec
CcYy Kibris HR Hirvatistan ME Karadag SI Slovenya
CZ  Cek Cumhuriyeti | HU Maceristan MK  Makedonya SK Slovakya
DE Almanya IE Irlanda MT Malta SM San Marino
DK Danimarka IS izlanda NL Hollanda TR Tiirkiye
EE Estonya IT ftalya NO Noveg

Avrupa patent sistemine iye llkelerin harita {lizerinde gosterimi Sekil 2.2°de

verilmistir.
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Sekil 2.2. Avrupa patent sistemine tiye tilkelerin harita iizerinde gésterimi

Avrupa patent sistemi, merkezi bir bagvuru olmasi, bagvurularin degerlendirilmesi

ve incelenmesi i¢in birlesik bir prosediir uygulamasi sebebi ile birden fazla {ilkede ayni

anda koruma saglayarak bagvuru sahiplerinin Avrupa pazarinda haklarini korumalarini

kolaylagtirmaktadir. Avrupa patent bagvuru siireci Gorsel 2.3 teki gibidir.
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Gorsel 2.3. Avrupa patent bagvuru siireci

2.2.2.5. Diger basvuru sistemleri

Ulusal bagvuru, PCT ve Avrupa patent basvuru siirecinden farkli olarak bazi cografi
bolgeler patent bagvurularin1 kapsayan bolgesel sistemlere sahiptir. Bagvuru sahibine
zaman ve maliyet avantaji saglayan bu sistemler, kapsadigi bolge ve iilkelere gore
farklilik gostermektedir.

Organisation Africaine De La Propriete Intellectuelle OAPI (Afrika Fikri Miilkiyet
Organizasyonu) Fransizca konusulan Afrika tilkeleri i¢in Afrika Bolgesel Sinai Miilkiyet
Orgiitiidiir. Uye iilkelerde OAPI sistemi disinda bir bagvuru yapmak miimkiin degildir.
OAPI sistemine iiye iilkeler listesi Tablo 2.3’teki gibidir.
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Tablo 2.4. OAPI sistemine iiye iilkeler

Ulke

Kod Kod Ulke Kod Ulke Kod Ulke
BF Burkina Faso CM Kamerun KM Comoros TD Chad
BJ Benin GA Gabon ML Mali TG Togo
CF Orta Afrika GN Gine MR Moritanya

Cumhuriyeti

CG Kongo GQ Ekvator Gine NE Nijer

Cl Fildisi Sahilleri | GW Gine-Bissau SN Senegal

OAPI sitemine iiye 17 iiye iilkenin harita iizerinde gosterimi Sekil 2.3 tedir.
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Sekil 2.3. OAPI sistemine iiye iilkelerin harita tizerinde gosterimi

African Regional Intellectual Property Organization (Giiney Afrika Gelismis

Patenti) Ingilizce konusulan Afrika iilkeleri igin Afrika Bélgesel Smai Miilkiyet

Orgiitiidiir. Bu sistem disinda Estavini hari¢ diger iiye iilkeler igin ayrica ulusal patent

basvurusu yapilabilmektedir. ARIPO fiye iilkeler listesi Tablo 2.5’te, harita iizerinde

gosterimi ise Sekil 2.4’teki gibidir.
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Tablo 2.5. ARIPO sistemine iiye iilkeler

Kod Ulke Kod Ulke Kod Ulke Kod Ulke
BW Burkina Faso LS Lesoto SC Seyseller UG Uganda
GH Gana MW Malavi SD Sudan ZM Zambiya
GM Gambiya Mz Mozambik SL  SierraLeone | ZW Zimbabve
KE Kenya NA Nanbiya ST  Sao Tome ve

Principe
LR Liberya RW Ruanda TZ Tanzanya
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Sekil 2.4. ARIPO sistemine iiye iilkelerin harita iizerinde gosterimi

Eurasian Patent Organization EAPO (Avrasya Patent Sistemi) Rusya Federasyonu
ve bazi eski Sovyet Cumbhuriyetlerini kapsayan bdlgesel bir patent basvuru ve
degerlendirme sistemidir. Bagvuru sahipleri, Avrasya Patent Ofisi araciligiyla tek bir
bagvuru yaparak bu bolgelerde patent korumasi alabilmektedirler. Bu sistem 8 iilkeyi
kapsamaktadir. EAPO sistemine iiye iilkeler listesi Tablo 2.6’da, harita iizerinde

gosterimi ise Sekil 2.5’teki gibidir.
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Tablo 2.6. EAPO sistemine iiye iilkeler

Kod Ulke Kod Ulke
AM Ermenistan Kz Kazakistan
AZ Azerbaycan RU Rusya
BY Belarus TJ Tacikistan
KG Kirgizistan ™ Tiirkmenistan

Rusya

Kazakistan

Kirgizistan

Azerbaycan Turkmenistan Tacikistan

Aciklama
EAPO Uye Ulkeleri

Sekil 2.5. EAPO iiye iilkelerin harita iizerinde gésterimi

Farkli patent sistemleri, buluslarin farkli cografi bolgelerde koruma altina
almalaria olanak tanimaktadir. Her iilkenin basvuru siiregleri ve mevzuatlar1 farklilik
gosterdigi gibi yukarida belirtilen basvuru sistemleri de farkli siire¢ ve mevzuatlara
tabidir.

Sonug olarak, farkli uluslararasi patent basvurusu sistemlerinin varligi, kiiresel
inovasyon ekosistemini desteklemenin yanisira, bagvurular esneklik ve diigiikk maliyetli
genis koruma olanaklari sunar. Bu avantajlar hem teknolojik ilerlemeyi hem de ekonomik

kalkinmay1 tesvik eden 6nemli faktorlerdir.
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3. MATERYAL VE YONTEM
Bu boéliimde tez kapsamindaki amaglarin belirlenmesi, bu amaglar dogrultusunda

yapilan ¢alisma yontemi ve kullanilan materyaller agiklanmustir.

3.1. Materyal

Patent veri tabanlari, bagvurusu yapilmis patentlerin teknik ve prosediirel verilerine
erisim saglayan veri kaynaklaridir. Ucretli ve iicretsiz birgok veri taban1 bulunmaktadir.
Bu veri tabanlart ayni verileri kullanmakta fakat farkli kullanici arayiizleri ile
desteklenmektedir. Patent verilerinin arastirilmasi i¢in bircok yontem bulunmaktadir.
Bunlar kullanim amaglarina gore farklilik gostermektedir. Bu tez kapsaminda elde
edilmesi gereken veriler i¢in 3 ayr1 materyal kullanilmistir. Bunlardan ilki EPO’nun
patent arastirma tabani olan Espacenet patent arastirma veri tabanidir. Espacenet veri
taban1 lizerinden CPC siniflar1 belirlenmistir. Belirlenen bu CPC simiflarinda arastirma
sorularina yonelik daha ayrintili analiz i¢in Derwent Innovation ve Patbase veri
tabanlarindan elde edilen veriler kullanilmistir. Veri dogrulamasi i¢in 2 ayr1 veri tabani
kullanilmis ve sayisal veriler karsilastirilarak dogrulamasi yoluna gidilmistir- Derwent
Innovation ve Patbase veri tabanlarindan tarih araligi (2000-2023), CPC simnifi ve Avrupa
patent sistemi Ozelinde arastirma yapilmuis, elde edilen verilerin analizi arastirmaci
tarafindan yapilmustir. Elde edilen veriler ArcGIS 10.8.2 yazilimi ile gorsellestirilmistir

Ayrica Avrupa patent sistemi ile diger bagvuru yontemlerinin karsilagtirilmasi
amaghh EPO tarafindan yillik olarak yaymlanan istatistik raporlar1 arastirilmis ve

yorumlanmistir. Bu raporlara EPO’nun web sayfasi tizerinden ulasilabilmektedir.

3.2. Calismanin Yontemi

Bu tez kapsaminda UA ve CBS alanindaki teknolojilerin CPC siniflari belirlenmis
sonrasinda belirlenen CPC siniflari i¢in 2000-2023 yillar1 arasinda Avrupa patent sistemi
ile yapilmig bagvuru verileri tespit edilmistir. Elde edilen veriler 1.2. bolimiindeki
arastirma sorularma yonelik analiz edilmis ve yorumlanmaya c¢alisilmistir. Calismaya

yonelik hazirlanmis yontem semast Gorsel 3.1°de verilmistir.
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3.2.1. CPC smiflarinin belirlenmesi

Patent siniflandirma sistemi, patent ve faydali modellerin teknolojileri 6zelinde
siniflandirilmas1 amagh yapilmis farkli dillerden kaynakli olusabilecek karmasalardan
bagimsiz olarak olusturulmus hiyerarsik bir yap1 igerisinde olusturulmustur. Bu
olusturulan hiyerarsik sistem ile dokiimanlar konusunda uzman kisiler tarafindan
gruplandirilmaktadir. Mevcutta kullanilan siniflandirma  sistemleri IPC ve CPC
siniflandirmasi olarak ikiye ayrilmaktadir. IPC siniflandirma sistemi 8 boliim ve bu
boliimlerle baglantili 70.000 alt grup icermektedir. CPC ise yayinlanmis patent
dokiimanlart i¢in yapilmis uluslararasi bir hiyerarsik siniflandirma sistemi olan IPC’yi
(uluslararasi patent siniflandirmasi) temel alan fakat IPC’ye gore daha detayli olan bir
siiflandirma sistemidir. [PC sistemi patentleri 8 ana baslik ve 70.000 alt grupta
siiflandirirken CPC sistemi 9 ana baglik ve 250.000 alt grup ile daha fazla ayrintili
aragtirmaya olanak saglamaktadir. Patent bagvurularinin arastirilmasinda CPC daha
siklikla kullanilan siniflandirma sistemidir. CPC sisteminin 9 ana basliklarini igeren genel
sinif listesi Tablo 3.1°de verilmistir.

“UA ve CBS alaninda yapilan patent basvurulart hangi CPC (ortak patent
siiflandirmasi) smiflarini kapsamaktadir?” aragtirma sorusu kapsaminda yapilan bu
calismada UA ve CBS alaninda yapilmis olan patent basvurularinin CPC patent siniflari
belirlenmistir.

Tablo 3.1. CPC genel sinif listesi

Simiflandirma Sembolii Bashk ve A¢iklama

Insan ihtiyaglart

Islemlerin Uygulanmasi; Tagima

Kimya, Metaliirji

Tekstil, Kagit

Insaat

Makine Miihendisligi, Aydinlatma, Isitma, Silahlar
Fizik

Elektrik

< I @& m m O O W »

Yeni Teknoloji Gelismeler

IPC ve CPC smiflandirma sistemi sektorel bir siniflandirma sistemi olmadig: i¢in

s0z konusu ana basliklar EPO’nun web sitesi tizerinden kullanilan patent aragtirma taban
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olan Espacenet {izerinden uzaktan algilama, harita, konumlandirma, veri isleme, 6l¢iim
ve navigasyon anahtar kelimeler kullanilarak sinif arastirmasi yapilmistir. Kullanilan
anahtar kelimeler UA ve CBS alaninda yapilan patent basvurularinin G ana baslig1 altinda
olan Fizik alaninda oldugu belirlenmistir. Ayrintili bir arastirma i¢in G-Fizik alanindaki
ana baglik altindaki alt siniflar incelenmis ve Tablo 3.2°de verilen CPC siniflar1 tespit
edilmistir. Siniflar alanda lider firmalarin patent bagvurulariin CPC smiflan ile
karsilastirilarak manuel dogrulama yapilmaya caligilmistir.

Tablo 3.2. U4 ve CBS CPC siniflart

Simf Aciklama

G01 Olgme, test etme

G02 Optik

GO06 Bilgi islem, hesaplama
G08 Sinyalizasyon

3.2.2. Belirlenen siniflara gore veri tabanlarinin arastirilmasi

Patent veri tabanlarindan arastirma anahtar kelime, bulus sahibi, bagvuru sahibi,
basvuru yapilan iilke, bagvuru sistemi, yayin tarih araligi, bagvuru tarih araligi, IPC sinifi,
CPC smift vb. bircok kriter ile yapilmaktadir. Elde edilen verilerin daraltilmast ve
genisletilmesi i¢in bu kriterler ayni arastirmada birlikte de kullanilabilmektedir.

EPO’nun yillik olarak yaymlamis oldugu istatistik raporlarina gore yillar bazinda
yapilan patent bagvurular: incelendiginde Avrupa patent sistemi ile yapilan bagvurularin
diger iilkeler ve sistemlere gore daha fazla tercih edildigi goriilmektedir. En son
yaymlanan 2022 yili raporuna gore teknolojiden bagimsiz olarak toplam yapilan
basvurularin %43,4’lin Avrupa patent sistemi ile yapildig1 belirtilmistir. Bu basvurulari
%24.9 ile Amerika Birlesik Devletleri, %11,2 Japonya, %9,8 Cin, %5,4 Kore ve %5,4 ile
diger bagvurular takip etmektedir®. En ¢ok tercih edilen bagvuru yéntemi olmast Avrupa
patent sistemi 0zelinde yapilacak arastirma sonuclarinin bolgesel veya tilkesel yapilan
arastirmalara gore daha saglikli veriler elde edilecegi seklinde yorumlanabilir.

Patent effect isimli 6zel firmanin 2023 yil1 i¢in yayinlanmis olan raporuna gore en

fazla Avrupa patent basvurusu yapan iilkelerin basinda 48.155 basvuru ile Amerika

3https://report-archive.epo.org/about-us/annual-reportsstatistics/statistics/2022/statistics/patent-
applications.html
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Birlesik Devletleri gelirken 24.966 ile Almanya ve 21.520 ile Japonya takip etmektedir.

Tiirkiye ise 601 basvuru ile 26. sirada yer almaktadir 4. Bu iilkelerin bagvuru sayilarmin

gosterildigi harita Sekil 3.1°deki gibidir.
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Sekil 3.1. 2023 yili en fazla Avrupa patent bagvurusu yapan iilkeler
Tirkiye’nin de i¢inde yer aldig1 G-20 iilkeleri 6zelinde degerlendirme yapildiginda
Tiirkiye Avrupa patent bagvurusu yapan G-20 ilkeleri igerisinde 13. Sirada yerini almigtir

®. Bu iilkelerin bagvuru sayilarmin gosterildigi harita Sekil 3.2°deki gibidir.

4 https://www.patentraporu.com/turkiyenin-patent-raporu-2023
S https://www.patentraporu.com/turkiyenin-patent-raporu-2023
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Sekil 3.2. 2023 yi/1 en fazla Avrupa patent basvurusu yapan G-20 zlkeleri

Bu tez kapsaminda 2000-2023 tarih araliginda ve Avrupa patent sitemine gore
basvurusu yapilmig bagvurular 6zelinde Tablo 3.2°de verilen CPC simiflarinin her biri igin
ayr1 ayri Derwent Innovation ve Patbase veri tabanlarindan aragtirma yapilmistir. Bu
aragtirmaya gore belirlenen CPC siniflarinda 2000-2023 yillar1 arasinda Avrupa patent
sitemi ile Derwent Innovation veri tabanindan toplamda 489.013 patent basvurusu ve
169.702 tescil edildigi tespit edilirken Patbase veri tabanindan 488.800 patent bagvurusu
ve 169.662 tescil edilmis patent yaymlandigi tespit edilmistir®. Buna gore her iki veri
tabanindan elde edilen sayisal degerlere gore basvuru sayisinda %0,044, tescil sayilarinda
ise %0,024 fark oldugu goriilmiistiir. Bu farklilik veri tabanlarinin arayiizlerindeki
farklilik veya arastirma tarihinde yayimnlanmis patent basvurularinin sayilarindaki

farkliliktan kaynaklanabilmektedir.

3.2.3. Arastirma sorular1 kapsaminda verilerin analizi

Bu boliimde amag¢ kapsaminda olusturulan arastirma sorulari olan; UA ve CBS

alanindaki belirlenen siniflarda 2000-2023 tarih aralifinda yapilmis Avrupa patent

626.03.2024 Patbase, 27.03.2024 Derwent Innovation verilerine gore
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basvurulariin smif bazinda yogunlugu, tescil sayilarinin bagvuru sayilarina orani, yillara
gore yogunlugu, Avrupa patent sistemi ve diger iilkelerin bagvuru sayisindaki dagilima,
en fazla bagvuru firmalar hangileridir sorularina karsilik gelecek veriler tespit edilmistir.
Bu veriler Derwent Innovation ve Patbase veri tabanlarindan elde edilmis ve dogrulugu

tespit edilmeye calisilmistir.

Buna gore Oncelikle Avrupa patent basvurulari igerisinde 2000-2023 tarih
araliginda hangi siniflarda yogunlukla bagvuru yapildig: arastirilmis ve en fazla bagvuru
yapilan ilk 5 smnif se¢ilmistir. Bu veriler diger arastirmalar i¢in temel veriler olup tiim

analizler bu 5 sinif 6zelinde yapilmustir.

Arastirma sorular1 kapsaminda elde edilen istatistiki veriler grafikler ve haritalar ile

gorsellestirilmistir.
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4. ARASTIRMA BULGULARI VE SONUCLAR

Bu boliimde, patent veri tabanlarindan elde edilen veriler detayli bir sekilde
incelenmis ve ayrintili bir sekilde degerlendirilmistir.

Patent verilerinin analizi, arastirmacilara teknolojik gelismeler hakkinda detayl1 bir
bakis agis1 sunmakta ve gelecekteki inovasyon yonlerini belirleme konusunda 6nemli bir
kaynak olusturmaktadir. Bu nedenle bu boliimde yapilan analizler, caligmanin odakladigi
temel noktalarin ortaya koyulmasi ve aragtirma sorularinin yanitlanmasi agisindan 6nem

arz etmektedir.

4.1. Arastirma Bulgular

Bu ¢alisma, belirlenen kriterler kapsaminda yapilan arastirmalar sonrasi elde edilen
verilerin istatistiksel analizlerinin yorumlanmasmma dayanmaktadir.  Caligmanin
kapsaminda belirlenmis arastirma sorular1 6zelinde gerekli olan veriler, veri
tabanlarindan arastirilmis ve 6ncelikle UA ve CBS alanindaki belirlenen siniflarda 2000-
2023 tarih araliginda yapilmis Avrupa patent bagvurularinin sinif bazinda yogunlugu
incelenmis, hangi teknoloji alanlarinda daha fazla patent bagvurusu yapildigi
belirlenmistir. Ayrica elde edilen bu verilere gore Avrupa patent basvurusu disinda en

fazla basgvuru yapilan iilkeler ve firmalar belirlenmistir.

4.1.1. CPC smiflarina gore analiz

Bu boliim, tezin 1.2. boliimiinde belirlenen “UA ve CBS alanindaki belirlenen
siiflarda 2000-2023 tarih araliginda yapilmis Avrupa patent bagvurularinin sinif bazinda
yogunlugu nasildir?” arastirma sorusuna yonelik bulgularin degerlendirilmesine
odaklanmaktadir. Bu kapsamda, elde edilen verilerin analizi sonucunda Tablo 4.1
olusturulmustur.

Tablo 4.1, UA ve CBS alanlarinda 6ne ¢ikan CPC smiflarinda Avrupa patent
sistemi ile yapilan patent bagvurularinin dagilimini ayrintili bir sekilde gostermektedir.

Analizler, belirli siniflara gore yapilan patent bagvurularinin toplam basvuru sayisi
icindeki dagilimimi belirlemek i¢in ylizdelik oranlar kullanilarak gerceklestirilmistir. Bu
kapsamli degerlendirme sonucunda, belirlenen smiflar ve belirlenen tarih araliginda
yapilan basvurularm %56,72'sinin GO6F CPC simifinda yer alan "idari, Ticari, Finansal,
Yonetim veya Denetim Amaclar1 I¢in Ozel Olarak Uyarlanmis Bilgi ve Iletisim

Teknolojisi (BIT)" alaninda odaklandig: tespit edilmistir.
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Tablo 4.1. 2000-2023 yillar: arasinda yapilan basvurularin CPC sinifina gére dagilimi

Simf CPC Sinif Aciklama Basvuru Sayis1 | Basvuru %

Mesafelerin, Seviyelerin veya Yerlesimlerin
Go1C Olgiilmesi, Haritacilik, Navigasyon, Jiroskopik 25.299 5,18
Aletler, Fotogrammetri veya Videogrammetri

G02B Optik Elemanlar, Sistemler ve Cihazlar 85.866 17,57
GO6F Elektrikli Dijital Veri Isleme 277.266 56,72

Idari, Ticari, Finansal, Yonetim veya Denetim
G06Q Amaglari i¢in Ozel Olarak Uyarlannmus Bilgi Ve 81.058 16,58
[letisim Teknolojisi [BIT]

G08G Trafik Kontrol Sistemleri 19.291 3,95

Ayrica, en az bagvurunun %3,95'lik oranla GO8G CPC sinifinda yer alan "Trafik
Kontrol Sistemleri" ve %5,18'lik oranla GO1C CPC smifinda yer alan "Mesafelerin,
Seviyelerin veya Yerlesimlerin Olgiilmesi, Haritacilik, Navigasyon, Jiroskopik Aletler,

Fotogrammetri veya Videogrammetri" alaninda gergeklestigi belirlenmistir.

4.1.2. Yillara gore basvuru sayilari

UA ve CBS alanindaki belirlenen siniflarda 2000-2023 tarih aralifinda yapilmis
Avrupa patent bagvurulariin yillara gore bagvuru yogunlugu incelenmis, bu bagvurularin
hangi donemlerde arttig1 veya azaldiginin kolaylikla gézlemlenebilmesi igin grafikler
olusturulmustur. Tablo 4.2 Arastirma sonuglar1 boliimiinde bu grafiklerdeki degisimlerin

sebepleri iizerine yorumlamalar yapilmustir.

Bu kapsamda elde edilen veriler belirlenen smiflardaki teknoloji alanlarindaki
gelismelerin ve yeniliklerin hangi yillarda hiz kazandigin1 veya yavasladigini anlamak
i¢cin 6nemlidir. Bu sonuglar teknoloji ve inovasyonun evrimini izlemek acisindan énemli

bir kaynak olugturmaktadir.

Bu verilerin grafikler ile gorsellestirilmesi, zaman igindeki egilimlerin ve
degisimlerin daha kolay ve hizli bir sekilde anlagilmasini saglamanin yan sira teknoloji
ile ilgili Ar-Ge galismalar1 yapan akademisyenlerin, bu alanda yatirim yapmay1 planlayan
firmalarin stratejilerini yonlendirme ve degerlendirmeleri i¢in karar vericiler degerli bir

ara¢ haline gelmektedir.
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Buna gore 2000-2023 yillar1 arasinda GO1C-Mesafelerin, Seviyelerin veya
Yerlesimlerin Olgiilmesi, Haritacilik, Navigasyon, Jiroskopik Aletler, Fotogrammetri
veya Videogrammetri sinifinda toplamda 25.299 patent bagvurusu yapilmis ve bu bagvuru

sayilariin yillara gore dagilimi Grafik 4.1°deki gibidir.

GOI1C Yillara Gore Bagvuru Sayilart
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Grafik 4.1. GO1C yullara gore basvuru sayilar
GO1C siifina ait bagvuru sayilar1 grafigi detayli bir sekilde incelendiginde, patent

bagvurularinin belli bir zaman araliginda istikrarli bir sekilde devam ederken bazi yillarda
belirgin bir sekilde degiskenlik gosterdigini ortaya koymustur. 2000-2010 yillari arasinda
basvuru sayilart mindr artiglarla diizenli bir grafik sergilerken 2010 yilindan sonra artis
gosterirken ve 2018 yilinda 1,755 basvuruyla zirve yaparken, takip eden yillarda bagvuru
sayilarinda bir diisiis yasandig1 gozlenmektedir.

En fazla diistisiin 2022 y1linda oldugu tespit edilmistir. Bir 6nceki yila gore %44'lik
bir azalma ile en fazla diislisiin yasandigi bu aralikta teknolojinin olgunlastigi bir
doygunluga ulastig1, teknolojinin yerini yeni bir teknolojinin aldigy, kiiresel ekonomik bir
durgunlugun yasandig1 patent bagvurularindaki bu diisiisii aciklayabilir.

Ilgili smfta Tiirkiye’de yapilan basvuru sayilari incelendiginde bu saymnmn 643
oldugu tespit edilmistir.

Bu yorumlardan ayr1 olarak son iki yil igerisindeki basvuru sayisindaki diistis bu
calismanin sinirhiliklar boliimiinde belirtilen patent basvurularinin bagvuru tarihinden
sonra 18 ay sonra yaymlanmasi ve yapilan aragtirmalarin yayimlanan patent basvurulari
tizerinden olmasi sebebine dayandirilabilir.

G02B CPC smifi Optik Elemanlar, Sistemler ve Cihazlar alaninda yapilan patent
bagvuru verileri incelendiginde, 2000 ile 2023 yillar1 arasinda toplamda 85.866 basvuru
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gerceklestirildigi goriilmektedir. Bu bagvurularin yillara gore dagilimi, Grafik 4.2'de

detayl1 olarak sunulmustur.

G02B Yillara Goére Bagvuru Sayilar
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Grafik 4.2. G02B yillara gore basvuru Sayilar
G02B sinifina ait patent bagvuru sayilari grafigi detayli bir sekilde incelendiginde,

bu alanda yapilan basvurularin 2000 ile 2010 yillar1 arasinda istikrarli bir artis egilimi
gosterdigi, 2011 yilindan itibaren basvuru sayilarindaki artisin daha da ivme kazandigi ve
2018 yilindan sonra diisme egilimi gosterdigi gdzlemlenmistir. Bu donemdeki egilimlerin
cesitli sebepleri olabilir.

Mgili smifta Tiirkiye’de yapilan basvuru sayilari incelendiginde bu saymin 1.504
oldugu tespit edilmistir.

2000-2010 yillart arasindaki istikrarli artiy, G002B sinifina giren teknolojilerin
olgunlasmasi ve bu alandaki arastirma ve gelistirme faaliyetlerinin artmasina baglh
olabilir. 2011 yilindan itibaren gozlemlenen ivmeli artis, bu alandaki teknolojik
ilerlemelerin hizlandig: ile iliskilendirilebilir.

2018 yilindan sonra bagvuru sayilarinda gézlemlenen diisiis teknolojik doygunluk,
pazarin belirli bir olgunluk seviyesine ulagmasi ve Ar-Ge yatirimlarindaki degisimler gibi
sebeplerle agiklanabilir. Ancak, son iki yil igerisindeki bagvuru sayilarindaki belirgin
diisiis, bu calismanin siirhiliklar boliimiinde belirtilen patent basvurularinin bagvuru
tarthinden itibaren 18 ay sonra yaymlanmasi ve yapilan arastirmalarin yalnizca
yayinlanan patent bagvurulan iizerinden gerceklestirilmesi olarak aciklanabilir ve 2022
ve 2023 yillarina ait bagvurularin biiyiikk bir kisminin heniiz yaymlanmamis olmasi

nedeniyle, mevcut verilerin tam bir resim sunmamasina sebep olmaktadir.
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GO6F Elektrikli Dijital Veri Isleme alaninda yapilan patent basvurularinin
incelenmesi, sonrast 2000 ile 2023 yillar1 arasinda ilgili simifta toplamda 277,266
basvurunun gerceklestirildigi tespit edilmistir. Bu ¢alisma kapsaminda incelenen CPC
siniflar igerisinde en fazla basvuru sayist GO6F simifina aittir. Bu basvurularin yillara

gore dagilima, Grafik 4.3'te detayli bir sekilde sunulmustur.

GOG6F Yillara Gore Bagvuru Sayilari
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Grafik 4.3. GO6F yillara gore basvuru sayilar

GOGF sinifina ait bagvuru sayilar1 grafigi detayl bir sekilde incelendiginde yapilan
patent bagvurularinin 2010 yilina kadar minimal artis ve azalislar gosterdigi, ancak 2010
yilindan sonra 2017 yilina kadar kesintisiz bir artis egilimi sergiledigi gozlemlenmistir.
2010 yil1 sonrasinda baglayan ve 2017 yilina kadar siiren kesintisiz artis egilimi, bu
alandaki teknolojik ilerlemelerin hiz kazanmasi, dijital veri isleme teknolojilerine olan
talebin artmasi ve yenilik¢i projelere yapilan yatirimlarin artmasi seklinde agiklanabilir.
Ayrica 2020 yilindan itibaren ise basvuru sayilarinda belirgin bir diisiis yasandigi
goriilmiistiir. Bu diislis, teknolojinin bir doygunluga ulastigi, pazardaki rekabetin
doygunluk noktasia ulastig1 veya Ar-Ge yatirimlarindaki degisimler gibi sebeplerle
agiklanabilir.

Mgili smifta Tiirkiye’de yapilan basvuru sayilari incelendiginde bu saymin 5.852
oldugu tespit edilmistir.

Son 2 yildaki bagvurularin azligi bu ¢alismanin sinirliliklar boliimiinde belirtilen
patent bagvurularinin bagvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayinlanmasi ve yapilan
arastirmalarin yalnizca yayinlanan patent bagvurulari tizerinden gergeklestirilmesi olarak

aciklanabilir ve 2022 ve 2023 yillarina ait bagvurularin biiylik bir kisminin heniiz
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yaymlanmamis olmasi nedeniyle, mevcut verilerin tam bir resim sunmamasina sebep
olmaktadir.

GO06Q, idari, Ticari, Finansal, Yonetim Veya Denetim Amaglar I¢in Ozel Olarak
Uyarlanmis Bilgi Ve letisim Teknolojisi (BIT) CPC sinifi dzelinde 2000-2023 yillari
arasinda toplam 81.058 patent bagvurusu yapildigi tespit edilmistir. Bu basvurularin

yillara gore dagilimi, Grafik 4.4'te detayli bir sekilde sunulmustur.

G06Q Yillara Gore Bagvuru Sayilari
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Grafik 4.4. G06Q yillara gore bagvuru sayilar

G06Q sinifina ait patent basvuru sayilar1 grafigi detayl bir sekilde incelendiginde,
belirli donemlerdeki egilimler ve degisimler dikkat ¢ekmektedir.

2001 yilinda, bir oOnceki yila gore %43.1'1ikk hizli bir artis yasandig
gozlemlenmistir. Bu donemdeki hizli artisin, muhtemelen dijitallesmenin ve 1is
siireglerinin otomasyonu konusundaki farkindaligin artmasi, yeni teknolojilerin
benimsenmesi ve bu alandaki yenilik¢i ¢oziimler i¢in artan talep ile iliskili olabilecegini
diisiindiirmektedir. Ancak, 2002 yilinda yaklasik ayn1 oranda bir diislis yasanmistir. Bu
ani artis ve ardindan gelen diisiis, muhtemelen piyasa kosullarindaki dalgalanmalardan,
ekonomik belirsizliklerden veya teknolojik beklentilerdeki kisa vadeli degisimlerden
kaynaklanabilecegini diisiindiirmektedir.

llgili simifta Tiirkiye’de yapilan basvuru sayilar incelendiginde bu saymin 895
oldugu tespit edilmistir.

Son 2 yildaki bagvurularin azligi bu ¢alismanin sinirliliklar boliimiinde belirtilen
patent bagvurularinin bagvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayinlanmasi ve yapilan
arastirmalarin yalnizca yayinlanan patent bagvurular tizerinden gergeklestirilmesi olarak

aciklanabilir ve 2022 ve 2023 yillarina ait bagvurularin biiylik bir kisminin heniiz
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yaymlanmamis olmasi nedeniyle, mevcut verilerin tam bir resim sunmamasina sebep
olmaktadir.

GO08G, Trafik Kontrol Sistemleri CPC sinifi 6zelinde 2000-2023 yillar1 arasinda
toplam 19.291 patent basvurusu yapildigi tespit edilmistir. Bu basvurularin yillara gore

dagilimi, Grafik 4.5'te detayl bir sekilde sunulmustur.
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Grafik 4.5. GO8G yillara gire basvuru sayilar

GO8G sinifina ait bagvuru sayilar grafigi detayli bir sekilde incelenmistir. Diger
simiflara gore daha diisiik basvuru sayisina sahip olan GO8G sinifinda, basvuru
egilimlerinin diger siniflara gore belirgin bir sekilde farklilik gosterdigi gézlemlenmistir.

GO8G smifinda 2014 yilinda yapilan patent bagvurularinda belirgin bir artigin
oldugu ve bu egilimin 2018 yilina kadar devam ettigi goriilmektedir. 2014 yilindaki bu
artis, akilli sehirler, otonom araglar ve gelismis trafik yonetim sistemleri gibi yeni
teknolojilerin ve uygulamalarin ortaya ¢ikmasiyla iligkilendirilebilir. Bu donemde, trafik
kontrol sistemleri ve bu alandaki yenilik¢i ¢oziimler tizerinde artan bir odaklanma ve
yatirim, patent basvurularinda gozle goriiliir bir artisa neden oldugu seklinde
yorumlanabilir.

Ozellikle diger smmiflardan farkli olarak, basvuru sayisindaki belirgin bir artisin
2014 yilinda basladig1 gézlenmistir. Ancak dikkate deger bir sekilde, bu artig egilimi 2018
yilinda durmus ve bagvuru sayilarinda bir diisiis gézlemlenmistir. Son iki y1l i¢erisindeki
basvuru sayisindaki diisiis bu c¢alismanin smirliliklar boliimiinde belirtilen patent
bagvurularinin basvuru tarthinden sonra 18 ay sonra yaymlanmasi ve yapilan

aragtirmalarin yayinlanan patent bagvurulari tizerinden olmasi sebebine dayandirilabilir.

38



4.1.3. Tescil sayllarinin bagvuru sayilarina orani

Patent basvurusu ve tescil istatistiklerinin karsilagtirilmasi, bir {ilkenin veya bir
kurulusun yenilikg¢iligini degerlendirmek i¢in temel Olgiitlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Bu karsilastirma, inovasyon aktivitesinin niceliksel ve kalitativ analizini
saglayarak, bir kurulusun veya bir iilkenin fikri miilkiyet portfoyiiniin etkinligini
degerlendirme amacini tagimaktadir-

Basvuru sayisi, bir kurulusun veya bir iilkenin ne kadar yogun bir sekilde
yenilik¢ilik yaptigini yansitan bir gostergesi iken yogun basvuru aktivitesi, potansiyel
olarak yaratic1 fikirlerin ve teknolojilerin varligina isaret etmektedir. Ancak, basvuru
sayisinin tek basina yeterli bir 6l¢iit olmadig1 bir gergektir; ¢linkii bagvurularin tescil
edilme orani da 6nemli bir gosterge olup dikkate alinmalidir.

Tescil sayisi, bagvurularin basariyla tamamlanarak koruma altina alindig1 ve resmi
olarak tanindig1 sayiy1 ifade etmektedir. Bu, bir kurulusun veya bir iilkenin inovasyon
cabalarimin ne kadarinin etkili oldugunu gostermektedir. Bagvuru ile tescil arasindaki
fark, bagvurularin ne kadarinin kabul edildigi ve koruma altina alindigina dair 6nemli bir
gosterge olarak ilgililere bilgi saglamaktadir.

Bu karsilastirma ayni zamanda fikri miilkiyet stratejilerinin etkinligini
degerlendirmek icin de kullanilmaktadir. Bir kurulusun ¢ok sayida basvuru yapmasi
ancak bunlarin biiylik bir kisminin tescil edilmemesi, fikri miilkiyet siireclerindeki
zayifliklara veya stratejik bir eksiklige isaret etmektedir.

Sonug olarak, patent bagvuru ve tescil istatistiklerinin karsilastirilmasi, bir iilkenin
veya bir kurulusun inovasyon yeteneklerini ve fikri miilkiyet stratejilerinin etkinligini
degerlendirmek i¢in kapsamli bir ara¢ saglamaktadir. Bu analiz, akademik ve endiistriyel
baglamlarda inovasyon politikalarinin ve stratejilerinin gelistirilmesi ve optimize
edilmesi i¢in 6nemli bir katki saglamaktadir.

Bu calisma kapsaminda 2000-2023 yillar1 arasindaki toplam bagvuru sayilar1 ve
tescil sayilart karsilastirilarak UA ve CBS alaninda belirlenen CPC simiflarda yapilmis
olan buluslarin ne kadar inovatif oldugu degerlendirilmeye ¢alisilmistir. Bu kapsamda her
0zelinde tescil sayilari belirlenen tarih araliginda ayr1 ayr1 degerlendirilmis grafikler ile
gorsellestirilmis ve yorumlanmastir.

Grafik 4.6'da sunulan GO01C Mesafelerin, Seviyelerin veya Yerlesimlerin
Olgiilmesi, Haritacilik, Navigasyon, Jiroskopik Aletler, Fotogrammetri veya

Videogrammetri simifindaki patent tescil sayilari incelendiginde, 2000 ile 2023 yillari
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arasinda 11,873 bagvurunun tescil edildigi belirlenmistir. Bu veriler, zaman igindeki
patent tescil siirecinde belirgin bir egilimi ortaya koymaktadir. Tescil sayilarimin 2000'li
yillarin baglarinda diisiik seviyelerde seyrettigi gozlemlenirken 2015 yili sonrasinda
ivmeli bir sekilde tescil sayilarinda artis oldugu tespit edilmistir. GO1C sinifinda bagvuru

sayilarinin tescil sayilarina orami karsilastirildiginda oranin yaklasik %47 oldugu

goriilmiistiir.
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Grafik 4.6. GO1C yillara gore tescil sayilar
Grafik 4.7'de sunulan G02B Optik Elemanlar, Sistemler ve Cihazlar simifindaki

patent tescil sayilari incelendiginde, 2000 ile 2023 yillar1 arasinda 36.872 basvurunun
tescil edildigi belirlenmistir. GO1C smifinda oldugu gibi tescil sayilarinin 2000'li yillarin
baslarinda diisiik seviyelerde iken 2015 yilindan 2019 yilina kadar hizl bir artig yasandigi
gbzlemlenmistir.

GO02B smifindaki tescil sayilarmin basvuru sayilariyla karsilastirilmasi sonrasi
2000-2023 yillar arasinda toplam sayilar tizerinden tescil oraninin yaklasik %43 oldugu

hesaplanmustir.
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Grafik 4.7. G02B yullara gore tescil sayilar:
GO6F Elektrikli Dijital Veri Isleme teknolojileri alaninda yapilmis patent

basvurulart i¢in alinmis tescil belgesi sayilarina bakildiginda 2000-2023 yillari arasinda
toplamda 97.009 bagvurunun tescil belgesi almaya hak kazandig1 goriilmiistiir. Grafik
incelendiginde diger siniflarda oldugu gibi 2000 li yillarin basinda tescil sayilar1 oldukca
diistikken diger smiflardan farkli olarak sayilarin 2014 yilindan sonra arttig1
gbzlemlenmistir.

GO6F smifindaki patent tescil istatistiklerinin basvuru sayilariyla karsilastirilmasi
sonucunda, 2000 ile 2023 yillar1 arasinda toplam tescil oraninin yaklasik %35 oldugu
hesaplanmistir. Calisma kapsaminda incelenen 5 sinif arasinda, GO6F tescil sayisinin en
yuksek oldugu siif olmasina ragmen bagvuru tescil oran1 agisindan dordiincii sirada yer
aldigr gozlemlenmistir. GO6F sinifinda yapilmig bagvurularin  2000-2023  yillar

arasindaki tescil sayilar1 grafigi Grafik 4.8’de verilmistir.
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Grafik 4.8. GO6F yillara gore tescil sayilart

GO06Q Idari, Ticari, Finansal, Yonetim veya Denetim Amagclari Icin Ozel Olarak
Uyarlanmis Bilgi Ve lletisim Teknolojisi (BIT) teknolojileri alaninda yapilmis patent
basvurulari i¢in alinmais tescil belgesi sayilarina bakildiginda 2000-2023 yillar1 arasinda
toplamda 15.437 basvurunun tescil belgesi almaya hak kazandig1 goriilmiistiir. Grafik
incelendiginde diger siiflarda oldugu gibi 2000 li yillarin basinda tescil sayilari oldukca
diisiikken 2015yilindan sonra tescil sayilarinda artis oldugu bu artisin 2020 yilinda
durdugu ve 2022 yilina kadar diislis oldugu gozlemlenmistir. Diger siniflardan farklh
olarak 2023 yilinda tescil sayilarinda yaklasik %62’lik artis dikkat ¢ekicidir. GO6Q
siifinda yapilmis bagvurularin 2000-2023 yillari arasindaki tescil sayilart grafigi Grafik

4.9’da verilmistir.
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Grafik 4.9. G06Q yillara gore tescil sayilar
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GO08G Trafik Kontrol Sistemleri teknolojileri alaninda yapilmis patent bagvurulari igin
alinmis tescil belgesi sayilarina bakildiginda 2000-2023 yillart arasinda toplamda 8471
basvurunun tescil belgesi almaya hak kazandig1 goriilmiistiir. Grafik incelendiginde diger
siniflarda oldugu gibi 2000 1i yillarin basinda tescil sayilar1 oldukca diisiikken 2014
yilindan sonra tescil sayilarinda artig oldugu goriilmiistiir. Diger siniflardan farkli olarak
2020 yilinda durdugu ve 2022 yilina kadar diisiis oldugu gozlemlenmistir. Diger
siniflardan farkli olarak tescil sayilarinda bir diisiis gézlemlenmemistir. GO8G sinifinda
yapilmis basvurularin 2000-2023 yillar1 arasindaki tescil sayilar grafigi Grafik 4.10°da

verilmigtir.
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Grafik 4.10. GO8G yillara gore tescil sayilari

Ozetlemek gerekirse ilgili siniflardaki tescil sayilar1 grafikler ve veriler {izerinden
analiz edilmis buna gore en fazla tescil sayis1 Go6F Elektrikli Dijital Veri Isleme
sinifindayken bagvuru sayisina gore tescil sayilart karsilastirildiginda GO1C smifindaki
tescil ile sonuglanan basvuru sayisi yiizdesinin %46,93 ile en fazla oldugu gortilmiistiir.
Basvuru sayilarinin tescil sayilarina oranin1 Tablo 4.2°de verilmistir. Ayrica bagvuru

sayilarinin tescil sayilari ile karsilastirildig grafik, Grafik 4.11°de verilmistir.
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Tablo 4.2. 2000-2023 yillar: arasinda yapilan basvuru sayilarimin tescil sayilarina orani

Sumf CPC Smif A¢iklama Basvuru Tescil Tescil %
mni

Sayisi Sayisi Oram

Mesafelerin, Seviyelerin veya Yerlesimlerin
G01C | Olgiilmesi, Haritacilik, Navigasyon, Jiroskopik 25.299 11.873 %46,93
Aletler, Fotogrammetri veya Videogrammetri

G02B | Optik Elemanlar, Sistemler ve Cihazlar 85.866 36.872 %42,94
GO6F | Elektrikli Dijital Veri Isleme 277.266 97.009 %34,98

Idari, Ticari, Finansal, Yonetim Veya Denetim
G06Q | Amaglari i¢in Ozel Olarak Uyarlannus Bilgi Ve 81.058 15.437 %319,04
fletisim Teknolojisi [BiT]

G08G | Trafik Kontrol Sistemleri 19.291 8.472 %43,91

Basvuru Sayilarimin Tescil Sayilari ile Karsilagtirmasi

400.000 97.009
350.000
300.000 277.268
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000 85.866 81.058

0 25.299 19.291
GO1C G02B GO6F G06Q G08G

11873 8.472

==@=—Basvuru Sayisi Tescil Sayisi

Grafik 4.11. 2000-2023 yulari arasinda yapilan basvuru sayilarimin tescil sayilart ile karsilagtirilmasi

4.1.4. EP basvuru sayilari ile diger iilkelere yapilan basvuru sayillarinin CPC sinifi

ozelinde karsilastirilmasi

Bu boliimde arastirma sorularindan biri olan 2000-2023 yillar arasinda en fazla
basvuru yapilan iilkelerin dagilimi incelenmistir. Yapilan bu inceleme ile UA ve CBS
alanindaki  teknoloji  trendlerindeki yonelimleri ortaya koyulabilecegi gibi
aragtirmacilarin ve firmalarin yatirrmlarini da ydnlendirebilecektir. Ornegin, belirlenen
CPC smiflarindan herhangi birinde Avrupa patent sistemi ile yapilan basvurularin diger
bolgelerdeki bagvurulara gore artis gdstermesi, o teknoloji alaninda Avrupa'da bir ivme

oldugunu ve bu alanda yatirim yapmanin 6nemli olabilecegine isaret etmektedir.
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Tek bagina bagvuru sayilarina dayali bir karsilagtirmanin yeterli olmayacagi gézardi
edilmemelidir. Yapilan patent bagvurularinin nitelikleri, inovatif yonleri ve ticari
potansiyelleri de dikkate alinmalidir.

Ayrica Avrupa patent sitemi ile yapilan basvuru verilerinin diger iilkelerdeki
basvuru sayilar ile karsilagtirilmast ticari gelismeleri dngdérmek ve yatirim stratejileri
olusturabilmek i¢in 6nemli bilgi kaynagi olacaktir.

GO01C-Mesafelerin, Seviyelerin veya Yerlesimlerin Olgiilmesi, Haritacilik,
Navigasyon, Jiroskopik Aletler, Fotogrammetri veya Videogrammetri sinifinda 2000-
2023 tarih araliginda Avrupa patent sistemi disinda yapilmis basvuru sayilari
incelendiginde 2.235 ile Almanya’nin Avrupa patent siteminden sonra en fazla bagvuru
yapilan lilke oldugu goriilmiistiir. Bu bagvurulari sirasiyla Japonya (688), Fransa (272),
Birlesik Krallik (245), Ispanya (68), Ukrayna (59), Giiney Afrika (77), Finlandiya (78)
ve Liiksemburg (47) takip etmektedir. Avrupa patent sistemi ile ayni tarih araliginda
25.299 bagvuru yapilmistir. Bu tlkelerde yapilan basvuru sayilart ve Avrupa patent
basvuru sayilarinin yer aldigi veriler Tablo 4.3’te ve GOIC smifinda Avrupa Patent
sistemi disinda en fazla bagvuru yapan {lilkelerin harita lizerinde gdsterimi Sekil 4.1.’deki
gibidir.

Tablo 4.3. GOIC sinifinda en fazla basvuru yapilan iilkeler

Ulke Basvuru sayis1 | Ulke Basvuru sayisi
EP 25.299 Ispanya 68
Almanya 2.235 Ukrayna 59
Japonya 688 Gliney Afrika 77
Fransa 272 Finlandiya 48
Birlesik Krallik 245 Liiksemburg 47
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Sekil 4.1. GO1C smnifinda en fazla basvuru yapilan iilkelerin harita iizerinde gésterimi

GO02B-Optik Elemanlar, Sistemler ve Cihazlar smifinda 2000-2023 tarih
aralifinda Avrupa patent sistemi disinda yapilan bagvuru sayilari incelendiginde,
Almanya’nin Avrupa patent sisteminden sonra en fazla bagvuru yapilan iilke oldugu
goriilmiistiir. Almanya, bu donemde toplamda 29.556 basvuru ile lider konumda yer
almistir. Bu bagvurular1 sirasiyla Japonya (23.793), Ispanya (4.253), Birlesik Krallik
(3.861), Fransa (3.160), Italya (1.016), Polonya (1.077), Ukrayna (704) ve Hollanda (704)
takip etmektedir. Ayni tarih araliginda Avrupa patent sistemi kapsaminda ise toplamda
71.076 basvuru yapilmistir. Bu veriler, GO2B sinifinda yapilan patent bagvurularinin

cografi dagilimin1 ve Avrupa’nin bu alandaki liderligini agik¢a ortaya koymaktadir.

Bu iilkelerde yapilan bagvuru sayilar1 ve Avrupa patent bagvuru sayilarin yer
aldig1 veriler Tablo 4.4’te ve GO2B sinifinda Avrupa Patent sistemi disinda en fazla

basvuru yapan iilkelerin harita iizerinde gosterimi Sekil 4.2°deki gibidir.
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Tablo 4.4. GO2B sinifinda en fazla basvuru yapilan iilkeler

Ulke Basvuru sayisi Ulke Basvuru sayisi
EP 71.076 Fransa 3.160
Almanya 29.556 Polonya 1.077
Japonya 23.793 Italya 1.016
Ispanya 4.253 Hollanda 704
Birlesik Krallik 3.821 Ukrayna 704
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Sekil 4.2. GO2B sinifinda en fazla bagvuru yapilan iilkelerin harita iizerinde gésterimi

GO6F- Elektrikli Dijital Veri Isleme sinifinda 2000-2023 tarih araliinda Avrupa
patent sistemi disinda yapilmis bagvuru sayilari incelendiginde GO1C ve G02B sinifinda
oldugu gibi 9.390 ile Avrupa patent sisteminden sonra en fazla bagvuru yapan tilkenin
Almanya oldugu goriilmiistiir. Bu bagvurular sirastyla Japonya (4.327), Birlesik Krallik
(2.785), Fransa (1.420), Giiney Afrika (688), Liiksemburg (361), Hollanda (313), Ispanya
(304) ve Finlandiya (250) takip etmektedir. Avrupa patent sistemi ile ayni tarih araliginda

41.881 bagvuru yapilmistir. Bu iilkelerde yapilan basvuru sayilar1 ve Avrupa patent
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basvuru sayilariin yer aldigi veriler Tablo 4.5’te ve GO6F sinifinda Avrupa Patent
sistemi disinda en fazla bagvuru yapan iilkelerin harita iizerinde gosterimi Sekil 4.3 teki
gibidir.

Tablo 4.5. GO6F sinifinda en fazla basvuru yapilan iilkeler

Ulke Basvuru sayis1 | Ulke Basvuru sayisi
EP 41.881 Giiney Afrika 688
Almanya 9.390 Liiksemburg 361
Japonya 4.327 Hollanda 313
Birlesik Krallik 2785 Ispanya 304
Fransa 1.420 Finlandiya 250
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Sekil 4.3. GOGF sinifinda en fazla bagvuru yapilan iilkelerin harita tizerinde gosterimi

GO06Q-idari, Ticari, Finansal, Yonetim Veya Denetim Amaglar1 i¢in Ozel Olarak
Uyarlanmus Bilgi Ve lletisim Teknolojisi (BIT) sinifinda 2000-2023 tarih araliginda
Avrupa patent sistemi disinda yapilmis basvuru sayilart incelendiginde diger 3 sinifta

oldugu gibi 69.348 ile Avrupa patent sisteminden sonra en fazla bagvuru yapan iilkenin
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Almanya oldugu goriilmiistiir. Bu bagvurulari sirastyla Japonya (32.220), Birlesik Krallik
(22.146), ispanya (12.147), Fransa (11.658), Romanya (5.844), Giiney Afrika (3.715),
Italya (3.708) ve Ukrayna (2.444) takip etmektedir. Avrupa patent sistemi ile ayni1 tarih
araliginda 264.895 basvuru yapilmistir. Bu iilkelerde yapilan bagvuru sayilar1 ve Avrupa
patent bagvuru sayilarinin yer aldigi veriler Tablo 4.6’da ve GO6F siifinda Avrupa Patent
sistemi disinda en fazla bagvuru yapan iilkelerin harita lizerinde gosterimi Sekil 4.4 teki
gibidir.

Tablo 4.6. GO6Q sinifinda en fazla basvuru yapilan iilkeler

Ulke Basvuru sayis1 | Ulke Basvuru sayisi
EP 264.895 Fransa 11.658
Almanya 69.348 Romanya 5.844
Japonya 32.220 Gtliney Afrika 3.715
Birlesik Krallik 22146 Italya 3.708
Ispanya 12.147 Ukrayna 2 444
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Sekil 4.4. GO6Q sinifinda en fazla basvuru yapilan iilkelerin harita iizerinde gésterimi
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GO08G-Trafik Kontrol Sistemleri sinifinda 2000-2023 tarih araliginda Avrupa
patent sistemi disinda yapilan bagvuru sayilar incelendiginde, diger tiim siniflarda oldugu
gibi Almanya’nin Avrupa patent sisteminden sonra en fazla bagvuru yapilan iilke oldugu
goriilmiistiir. Almanya, bu donemde toplamda 17.022 basvuru ile lider konumda yer
almaktadir. Almanya’y1 5.036 basvuru ile Japonya izlemektedir ve bu iilke de trafik
kontrol sistemleri alaninda 6nemli bir oyuncu oldugunu gostermektedir. Bu bagvurulari
sirastyla Fransa (2.018), Birlesik Krallik (1.452), Ispanya (1.338), Polonya (1.077), italya
(547), Ukrayna (352) ve Isveg (258) takip etmektedir. Avrupa patent sistemi ile ayni tarih
araliginda 18.701 basvuru yapilmstir.

Dikkate deger bir durum, GO8G sinifinda Avrupa patent sistemi ile iilkelerde
yapilan basvuru sayilari arasindaki farkin diger siniflara kiyasla ¢ok fazla olmamasidir.
Bu, trafik kontrol sistemleri alaninda Avrupa patent sisteminin yani sira ulusal patent
sistemlerinin de yogun bir sekilde kullanildigini ve basvuru dagiliminin daha dengeli
oldugu seklinde yorumlanabilir. Ozellikle Almanya hem ulusal hem de Avrupa patent
sisteminde en fazla basvuruyu yapan iilke olarak bu alandaki teknoloji ve yenilik
tiretiminde liderligini korumaktadir. Avrupa patent sistemi ve ulusal sistemlerdeki
basvuru sayilar1 arasindaki bu yakinlik, Avrupa'nin bu alandaki teknoloji ve inovasyona
olan giiclii ilgisini gostermektedir.

Bu iilkelerde yapilan bagvuru sayilar1 ve Avrupa patent basvuru sayilarinin yer
aldig1 veriler Tablo 4.7°de ve GO6F simifinda Avrupa Patent sistemi diginda en fazla
basvuru yapan lilkelerin harita iizerinde gosterimi Sekil 4.5’teki gibidir.

Tablo 4.7. GO8G swnifinda en fazla bagsvuru yapilan iilkeler

Ulke Basvuru sayisi Ulke Basvuru sayisi

EP 18.701 | ispanya 1.338
Almanya 17.022 | Polonya 1.077
Japonya 5.036 | italya 547
Fransa 2018 Ukrayna 352
Birlesik Krallik 1.452 Isvec 258
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Sekil 4.5. GOSG sinifinda en fazla bagvuru yapilan iilkelerin harita tizerinde gosterimi

Tim smiflar incelendiginde, Avrupa patent sisteminden sonra patent bagvurusu
icin en fazla tercih edilen lilkenin Almanya oldugu belirlenmistir. Ayrica, tiim siniflarda
Avrupa patent sistemi ve Almanya'nin ardindan en fazla bagvurunun Japonya'da yapildigi
gozlemlenmistir. Bu iki lilkenin patent bagvurusu siralamasinda 6ne ¢ikmasi, inovasyon
ekosistemi igerisinde giiclii olduklarinin agik bir gostergesi olarak yorumlanabilir.
Almanya ve Japonya’nin bu iistiin konumu, teknoloji ve yenilik gelistirme alaninda sahip
olduklar1 yetkinlik ve kapasiteyi yansitmakta, ayn1 zamanda kiiresel inovasyon aglarinda
onemli birer aktdr olduklarini ortaya koymaktadir. Bu durum hem Almanya hem de
Japonya'nin arastirma-gelistirme faaliyetlerine yaptigi siirekli yatirimlarin ve bu alanlarda

sagladiklar1 desteklerin bir sonucu olarak degerlendirilebilir.

4.1.5. Tigili simiflarda en fazla bagvuru yapan firmalar

Ar-Ge c¢alismalar1 sonrasi ortaya ¢ikan yenilik¢i fikirler, teknolojiler, fikir tiriinleri
inovasyon ekosistemini gelistirilen birer ¢ikt1 olarak degerlendirilmektedir. Bu ¢iktilarin
bazilar1 ekonomik degere doniisiirken bazilart ise yeni Ar-Ge calismalarina 151k tutan
caligmalar olarak katma deger olusturmaktadir. Genel olarak ilgili siniflarda yapilan

patent bagvurularinin bagvuru sahiplerinin gilinlilk hayatimizda karsimiza ¢ikan firmalar

51



oldugu goriilmektedir. Bu kapsamda ilgili smiflarda yapilan patent basvurularinin
ozellikle otomotiv sektoriinde son kullanicinin deneyimleyebildigi teknolojilerle ilgili
oldugu soylenebilmektedir.

Bu c¢alisma kapsaminda belirlenen siniflarda en fazla basvuru yapan firmalar tespit
edilmis, ilgili alanda bu firmalarin yetkinlikleri ve teknoloji bazindaki istlinliikleri
degerlendirilmeye ¢alisilmistir.

Yapilan ¢alismada GO1C-Mesafelerin, Seviyelerin veya Yerlesimlerin Olgiilmest,
Haritacilik, Navigasyon, Jiroskopik Aletler, Fotogrammetri veya Videogrammetri
siifinda Bosch GMBH Robert 2000-2023 yillar1 arasinda 343 ile en fazla Avrupa patent
basvurusu yapan firma iken Bosch GMBH Robert firmasini1 238 Avrupa patent bagvurusu
ile Ford Global Tech LCC izlemistir. Yapilan arastirmaya gore ilgili tarih araliginda
GO1C smifinda en fazla Avrupa patent bagvurusu yapan 10 firmanin basvuru sayilarini

gosteren grafik Grafik 4.12.’de verilmistir.

GO1C en fazla bagvuru yapan firmalar ve bagvuru sayilari

HUAWEITECH COLTD msss—— 101
HERE GLOBAL BV s 102
TOPCON CORP memmmmmmmm—— 115
TOYOTA MOTORCO LTD mammmm— 134
GM GLOBAL TECH OPERATIONS LLC s 136
VOLKSWAGEN AG s 148
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG I 160
HONEYWELL INT INC e 173
FORD GLOBALTECH LCC m—— 33

BOSCH GMBH ROBERT I 343

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Grafik 4.12 GO1C en fazla bagvuru yapan firmalar ve bagvuru sayilari
G02B- Optik Elemanlar, Sistemler ve Cihazlar sinifi incelendiginde de liderlik

Bosch GMBH Robert firmasina aittir. Firmanin 2000-2023 yillar1 arasinda 2.481 Avrupa
patent basvurusu yapildig1 goriiliirken, bunu 1.302 basvuru ile Honey Int. Inc. Firmasi
takip etmistir. Ilgili tarih araliginda G02B sinifinda en fazla Avrupa patent basvurusu

yapan 10 firmanin basvuru sayilarini gosteren grafik Grafik 4.13.’te verilmistir.
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G02B en fazla basvuru yapan firmalar ve bagvuru sayilari

DAIMLERAG s 534
MITSUBISHI ELECTRIC CORP n—— 620
DENSO CORP mmmmmm—. 663
VOLKSWAGEN AG . 673
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG s 631
TOYOTA MOTORCO LTD s 632
THALES SA mmmm———— 720
FORD GLOBALTECH LCC . 759
HONEYWELL INT INC e 1302

BOSCH GMBH ROBERT I 2481

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Grafik 4.13 GO2B en fazla basvuru yapan firmalar ve basvuru sayilar:

GO6F- Elektrikli Dijital Veri isleme sinifinda 2000-2023 yillar arasinda toplamda
en fazla Avrupa patent bagvursu yapan firma Samsung Electronics Co Ltd firmasidir.
Firma ilgili tarih araliginda toplamda 2348 basvuru yapmistir. GO6F firmasinda diger 4
siiftakinden farkli olarak 3 firmanin olmasi dikkat ¢ekmektedir. Bu firmalar Google
LLC, Beijing BaiduNtcom SCl&tech Co Ltd ve Apple Inc firmalaridir. ilgili tarih
araliginda GO6F smifinda en fazla Avrupa patent bagvurusu yapan 10 firmanin bagvuru

sayilarin1 gosteren grafik Grafik 4.14.’te verilmistir.

GOG6F en fazla bagvuru yapan firmalar ve basvuru sayilar

APPLE INC NN 610
SIEMENS AG N 614
BEIJING BAIDU NETCOM SCI& TECH CO LTD N 708
GOOGLE LLC s 305
IBM I 018
BOSCH GMBH ROBERT IS 1113
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC e 1744
INTEL CORP I 1789
HUAWEITECH CO LTD I 1880

SAMSUNG ELECTRONICS COLTD I 2348

0 500 1000 1500 2000 2500

Grafik 4.14. GO6F en fazla basvuru yapan firmalar ve basvuru sayilari
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GO06Q-idari, Ticari, Finansal, Yonetim Veya Denetim Amaglari i¢in Ozel Olarak
Uyarlanmis Bilgi Ve Iletisim Teknolojisi (BIT) GO1B ve G02C siniflaridan farkl1 olarak
en fazla Avrupa patent basvurusu yapmis olan firma Samsung Electronics Co Ltd. dir.
Bosch GMBH Robert ise 4572 Avrupa patent bagvurusu ile 7. Sirada yer almustir. lgili
tarih araliginda GO6F sinifinda en fazla Avrupa patent bagvurusu yapan 10 firmanin

basvuru sayilarini gosteren grafik 4.15.’te verilmistir.

G06Q en fazla bagvuru yapan firmalar ve basvuru sayilari

FUITSU LTD I 3984
QUALCOMM INC I 4295
BOSCH GMBH ROBERT I 4572
SONY CORP I 4641
BV I 6045
SIEMENS AG I 6373
HUAWEITECH COLTD I 6415

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Grafik 4.15. G06Q en fazla basvuru yapan firmalar ve bagvuru sayilar
GO08G- Trafik Kontrol Sistemleri sinifinda 2000-2023 yillar1 arasinda toplamda

en fazla Avrupa patent basvurus yapan firma GO1C ve G02B siniflarinda da oldugu gibi
Bosch GMBH Robert firmasidir. Bu sinifta yapilan bagvurularda ilk 10 icerisinde Toyota
Motor Co Ltd, Ford Global Tech LCC, Volkswagen AG, Audi AG, Mitsubishi Electric
Crop gibi otomotiv sektoriinde firmalarin olusu bu siniftaki bagvurularin agirlikla
otomotiv sektdriinde kullamldiginin bir gostergesidir. Ilgili tarih araliginda G08G
siifinda en fazla Avrupa patent bagvurusu yapan 10 firmanin bagvuru sayilarini gésteren

grafik Grafik 4.16.’da verilmistir.
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GO08G en fazla bagvuru yapan firmalar ve bagvuru sayilari

MITSUBISHI ELECTRIC CORP N 679
AUDIAG NN 766
HONEYWELL INT INC NN 967
DENSO CORP N 1060
VOLKSWAGEN AG I 1107
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG I 1124
DAIMLER AG I 1139
FORD GLOBALTECH LCC N 1192
TOYOTAMOTORCOLTD I 1705
BOSCH GMBH ROBERT I 2912

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Grafik 4.16. GO8G en fazla basvuru yapan firmalar ve basvuru sayilar

“En ¢ok patent basvurusu yapan firmalar hangileridir?” arastirma sorusunun
karsiliginda yapilan ¢aligmada genelde sektorde lider firmalarin CPC smiflart farklilik

gosterse de ¢ok fazla degismedigi gozlemlenmistir.

4.2. Arastirma Sonuclari

Arastirma sorular1 kapsaminda yapilan degerlendirmeler sonrasi, CPC siniflari
0zelinde benzer sonuglara ulasmis olmasina ragmen bazi dikkate deger noktalarin tespit
edilmesi miimkiin olmustur. Bu noktalar, patent bagvurularinin incelenmesi siirecinde
ortaya cikan ¢esitli 6zellikler ve egilimlerle ilgilidir.

Oncelikle, GO6F-Elektrikli Dijital Veri Isleme sinifinda yapilan patent basvuru
sayisinin diger siniflardaki bagvuru sayilarinin toplamindan fazla olmasi dikkat ¢ekicidir.
Bu durum, belirli bir teknoloji alaninda yogun Ar-Ge faaliyetlerinin oldugunu ve bu alana
olan talebin yiiksek oldugunu gosterebilecegi gibi bu teknoloji alaninindaki patentlerin
cok fazla sektdrde kullanilabiliyor olacginin da bir gdstergesi olabilir. Her iki durumda
da bu siniftaki bagvurularin tcari potansiyelinin yiiksek olacagi seklinde yorumlanmaistir.
Bunun yanisira, GO8G- Trafik Kontrol Sistemleri sinifindaki patent bagvuru sayisinin
diger smifta yapilmis patent bagvuru sayilarina gore daha az sayida olmasi da dikkat
cekici bir diger nokta olmustur. Bu durum, belirli bir teknoloji alaninda potansiyel
firsatlarin heniiz kesfedilmemis veya lizerinde yeterince g¢alisiilmamis olabilecegini
gosterebilicegi gibi bu alanda yapilmis caligmalarin teknolojik olgunluga ulasmis
olabileceginin de bir gostregesi olabilecegi seklinde degerlendirilmistir. Bunun net olarak

tespit edilebilmesi i¢in calisma kapsaminda secgilen 2000-2023 tarih araliginin gegcmis
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yillara dogru bu siif bazinda genisletilmesi ve degerlendirilmesi izlenebilecek yollardan
birisi olarak karsimiza g¢ikmaktadir. Yapilabilecek bu calisma sonrasi teknolojinin
gelismeye acik, firsatlarin fazla olmasi sonucuna varilmasi durumunda Ar-Ge
yatirrmlarinin ve endiistriyel ¢abalarin bu teknoloji alaninda odaklanilmasi ve bu
alanlardaki potansiyeli kesfetme cabalarinin 6nem kazanmasi gerekecegi sonucuna
varilabilir.

Basvuru sayilar1  grafiklerinin  yillara gore degisimleri genel olarak
degerlendirildiginde 4 sinif i¢in basvuru sayilarindaki artis 2004 yilinda baslamisken
GO08G- Trafik Kontrol Sistemleri sinifinda 2014 yilinda artis yagsanmaya baglanmistir. Bu
durum yukarida aciklanan en az basvuru yapilan simif olmasimi agiklarken bu simiftaki
teknoloji alaninda potansiyel firsatlarin daha yakin zamanda kesfedilmis olmasini veya
bu alanda yeterince ¢alisma yapilmamis olmasini desteklemistir.

Yine ayni grafiklerde 5 smif iginde basvuru sayilarinin 2018 ve 2019 yillarinda
zirve yaptigi goriilirken hizli bir disiis degil artis hizina yakin diisiisler oldugu
gbzlemlenmistir. Buda teknolojinin doygunluga ulastig1 seklinde yorumlanabilir. Tiim
grafiklerde goriilen 2022 ve 2023 yillarindaki keskin diisiiler yukarida ve sinirlikliklarda
aciklandigi gibi patent bagvurularinin bagvuru tarihinden 18 ay sonra yayinlanmasindan
kaynaklanmaktadir.

Grafiklerde gozlemlenen bu tiir degiskenlikler, genellikle cesitli faktorlerden
kaynaklanabilir. Ornegin, ekonomik dalgalanmalar veya teknolojik yeniliklerin ivme
kazanmasi seklinde yorumlanabilir. Garfiklerdeki zirveler, teknolojik alanin o donemde
popiiler veya ticari olarak degerli oldugunu diisiindiirebilirk, zirve sonras1 diisiisler takip
eden yillarda bu alanin 6neminin azaldig1 veya rekabetin arttig1 bir doneme girildigini
gosterebilir. Bagvuru sayilarini gosteren grafiklerdeki bu tiir degiskenliklerin anlagilmasi,
teknolojik trendlerin ve pazar dinamiklerinin daha iyi degerlendirilmesine yardimci
olacaktir. Bu bilgiler, arastirmacilara sektordeki yenilikleri ve pazar trendlerini
degerlendirme imkani sunmakta boylece gelecekte yiiriitiilecek Ar-Ge ve inovasyon
calismalari i¢in vizyon ve strateji olusturma noktasinda rehberlik saglamaktadir.

Patent bagvurusu grafiklerindeki bu dalgalanmalar ilgili oldugu teknolojiler i¢in
yapilmis patent basgvurularinin zaman i¢indeki egilimlerin ve degisimlerin anlagilmasi
hususunda yardimci olmaktadir. Bagvuru sayilarinda gozlenen belirli donemlerdeki
yiikselis ve diisiisler teknolojik gelismelerin ve endiistriyel taleplerin ilgili oldugu yillarda

ne yonde degistigine dair onemli verilerdir. Bu ¢alisma kapsaminda Optik alaninda
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yapilmis patent bagvurulariin artis gosteriyor olmasi optik teknolojilerinin glintimiizde
giderek daha fazla onem kazandiginin gostergesidir. Optik elemanlar, sistemler ve
cihazlar, birgok endiistride kullanilan temel teknolojilerdir ve yeni gelismelerin ve
buluslarin patentlenmesi, bu alandaki rekabeti ve inovasyonu tesvik etmektedir.

Tescil sayilar1 grafikleri yorumlandiginda 2000’11 yillarin basinda tescil sayilarinin
cok diisiik hatta sifir oldugu goriilmiistiir. Bir patent bagvurusunun yaklagik 3 ila 5 yil
arasinda tescil ile sonuc¢landig1 disiliniildiigiinde bu sayilarin ¢ok disiik hatta sifir
olmasinin sebebinin 1990 I yillarda bu siniflarda yapilan basvuru sayilarinin ¢ok diisiik
oldugu sonucunu dogurmaktadir. Her bagvuru tescil ile sonuglanmadigi diisiiniiliirse bu
yillarda basvurularin olmadigi degil bagvuru sayilarinin diisik oldugu seklinde
yorumlanmalidir. Tiim siniflarda 2022 yilinda tescil oranlarinda belirgin bir diisiis oldugu
tespit edilmistir. Bu diisiisli pandemi doneminde yapilan patent bagvurularinin teknolojik
odaginin yon degistirmis oldugu seklinde yorumlamak dogru olacaktir.

Dikkate deger bir diger nokta ise tescil sayilarinin basvuru sayilarina oranlandigi
tablo ve grafikte goriilebilir. Buna gore tiim smiflarda bir¢ok grafikte ayrisan GO8G-
Trafik Kontrol Sistemleri sinift en z bagvuru yapilan sinif olmasina ragmen tescil orani
en yiiksek ikinci teknoloji sinifidir. En yiiksek ygzdeye sahip teknoloji sinifi ise bagvuru
sayisi siralamasinda en az olan digeri olan GO1C- Mesafelerin, Seviyelerin veya
Yerlesimlerin Olgiilmesi, Haritacilik, Navigasyon, Jiroskopik Aletler, Fotogrammetri
veya Videogrammetri smifidir. Bu sonuglardan yola ¢ikarak bu 2 sinifta teknolojilerin
patentlenebilirlik kriterlerini daha fazla karsiladig1 gergegi ile potansiyel olarak yaratici
fikirlerin ve teknolojilerin varligina isaret etmektedir.

Bagvuru yapilan tilke verileri Avrupa patent sistemi ile yapilan basvurular ile
karsilastirildiginda belirlenen 5 sinif i¢in en fazla tercih edilen bagvurunun Avrupa patent
sistemi oldugu goriilmiistiir. Bunun sebebi Avrupa patent basvuru sisteminin tek bir iglem
ile maliyetin daha diisiik olmasi olabilecegi gibi sisteme iiye 39 iilkenin biiylik bir
kisminda ticari potansiyelinin olabilecegi anlamina da gelebilir.

Avrupa patent basvurusu haricinde tercih edilen iilkeler incelendiginde tiim
siiflarda Avrupa patent bagvurusu haricinde en ¢ok tercih edilen iilkenin Almanya
oldugu gériilmiistiir yine tiim siniflarda Almanya’y1 Japonya takip etmektedir. Ozetle bu
tez kapsaminda belirlenen 5 sinif i¢in en ¢ok tercih edilen bagvurular sirasiyla Avrupa

patent sitemi, Almanya ve Japonya’dir. Bu UA ve CBS teknolojilerinin ticari
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potansiyelinin en fazla oldugu iilkelerin belirlenmesi, patent basvurusu koruma strateh-
ilerinin belirlenmesi i¢in 6nemli bir veridir.

Ulkelere yapilan basvurularda smiflara 6zgii koruma taleplerinin incelenmesi
sonucunda, Avrupa patentine ek olarak Almanya ve Japonya'nin yanisira Fransa, Birlesik
Krallik ve Ispanya'nin tiim siniflarda tercih edildigi tespit edilmistir. Bununla birlikte her
smifta olmasada diger iilkelerin tercih edildigi gdzlemlenmistir; bu iilkeler Italya,
Ukrayna, Polonya, Isveg, Giiney Afrika, Finlandiya, Liiksemburg, Hollanda ve
Romanya’dir. Bu {ilkelerden bir¢cogu ¢esitli siniflarda tercih edilirken, Romanya'nin
5.844 basvuru sayisi ile sadece GO6Q smifinda yer alan Idari, Ticari, Finansal, Yonetim
veya Denetim Amaglari i¢in Ozel Olarak Uyarlanmus Bilgi ve iletisim Teknolojisi (BIT)
teknolojileri sinifinda en ¢ok tercih edilen 7. iilke olarak tercih edilmesi dikkat c¢ekicidir.
Bu durum, Romanya'nin belirli bir alanda 6zel bir uzmanlik veya ilgiye sahip
olabilecegini diisiindiirmektedir.

Firmalarin yapmis oldugu patent bagvurular1 grafikleri incelendiginde dikkat ¢ekici
nokta, belirli bir firma veya grup tarafindan yapilan yogun patent bagvurularidir. Bu
durum, s6z konusu firmanin yenilik¢ilige ve teknolojik liderlige verdigi 6nemi gosterir.
Ayni zamanda, bu firmanin rekabet avantajini siirdiirme ve pazar payini koruma
cabalarini yansitmaktadir.

Tim bu dikkate deger noktalar, patent basvurularinin analiz edilmesinin, bir
endiistrinin ve teknoloji alaninin dinamiklerini anlamak i¢in énemli bir ara¢ oldugunu
vurgulamaktadir. Bu tiir analizler, yenilik¢ilik kiiltiiriinii ve ¢aligmalarini gelistirmek,
rekabet giiclinii artirmak igin stratejik kararlarin alinmasina yardimei olabilecek veriye
dayali somut adimlar ile temel olusturmaktadir.

Bu calisma kapsaminda yapilan analizde belirlenen smiflarda en c¢ok patent
basvurusu yapan firmalarin belirlenen CPC siniflarinda siralamada farklilik gostersede
genel olarak ayni firmalar oldugu goriilmistiir. Yogunlukta bagvuru yapan firmalar;
Bosch GMBH Robert, Ford Global Tech LCC, Toyota Motor Co Ltd, Ford Global Tech
LCC, Volkswagen AG, Audi AG, Mitsubishi Electric Crop vb firmalardir. Bu firmalarin
yogunlukla otomotiv sektdriinde faaliyet gosteren firmalar olmasit UA ve CBS
teknolojilerinin yogunlukla otomotiv sektorii tarafindan tercih edildigi seklinde
yorumlanabilir.

Grafikler icerisinde en dikkat ¢ekici diger bir nokta Google LLC, Beijing Baidu
Netcom SCI & Tech Co LTD ve Apple INC firmalarinin sadece GO6F- Elektrikli Dijital

58



Veri Isleme CPC smifinda basvuru yaptign goriilmiistiir. Bu sonugtan yola ¢ikarak
Elektrikli Dijital Veri Isleme sinifindaki galismalarin teknoloji firmalarinin odaginda
oldugu soylenebilir.

Onemli oldugu diisiiniilen bir diger tespit ise GO6F- Elektrikli Dijital Veri Isleme
ve G06Q- Idari, Ticari, Finansal, Yénetim Veya Denetim Amaglari Icin Ozel Olarak
Uyarlanmus Bilgi Ve Iletisim Teknolojisi (BIT) siifinda bagvuru yapan firmalarin %70’i
aym firmalardir ve diger siniflara gore farklilik gostermektedir. Bu sonug iki sinifa ait
teknolojilerin birbirine yakin teknolojiler oldugu sonucunu ¢ikarabiliriz.

Patent bagvuru istatistiklerinin analizi bir¢ok acidan bilgileri saglarken, yenilik ve
Ar-Ge faaliyetlerinin degerlendirilmesi, uluslararasi igbirligi ve ticaret potansiyelinin
belirlenmesi, pazar trendlerinin ve odak alanlarinin belirlenmesi amagli kullanilan en
onemli enstriimanlardan biridir. Bu yontem ile bu calisma kapsaminda UA ve CBS
alaninda en ¢ok bagvuru yapilan teknolojiler, bu teknolojilerin trend oldugu donemler, bu
calismalar1 odagina alan firmalar ve ticari potansiyeli yiiksek olan iilkeler belirlenmeye

calisiimistir.
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5. TARTISMALAR VE ONERILER

Patent verilerinin analizi, teknolojinin gelisim yOniinii belirlemek ve ticari
potansiyelini degerlendirmek i¢in siklikla kullanilan bir yontemdir. Literatiirde,
genellikle belirli bir teknolojinin hangi bolgelerde yogun olarak patent bagvurularina
konu oldugunu veya iilkelerin hangi teknoloji alanlarina odaklandigini analiz etmek
amaciyla birgok c¢aligma yapilmistir. Ancak, belirli bir ana bilim dalina odaklanarak
patent verilerinin analiz edildigi ¢alismalara pek rastlanmamustir.

Literatiir analizi sonras1 bu alanda tespit edilen bosluktan dolay1, uzaktan algilama
ve cografi bilgi sistemleri alanindaki teknolojilerin Avrupa patent sistemi 6zelinde bir
arastirma yapilmistir. Bu aragtirmaya temel olusturmasi ig¢in Oncelikle ortak patent
siniflandirmas1 (CPC) kapsamindaki patent siniflariin belirlenmesi amacl arastirma
yapilmistir. Arastirma sonrasi belirlenen siniflar 6zelinde 2000-2023 yillar1 arasinda
Avrupa patent sistemi iizerinden yapilan bagvuru ve tescil sayilari, Derwent Innovation
ve Patbase veri tabanlarindan elde edilmis, bu veriler, yillara gére bagvuru ve tescil
sayilar1 ile en ¢ok basvuru yapilan iilkelerin belirlenmesi ve bu siniflarda 6ne ¢ikan
basvuru yapan firmalarin analiz edilmesi amaciyla incelenmistir.

Yapilan ¢aligma sonucunda, UA ve CBS alanlarinda yapilan patent bagvurularinin
2009 yilindan itibaren artis gosterdigi, 2019 yilinda zirveye ulastigi ve sonrasinda
azaldigy; tescil sayilariin ise 2000’11 yillarin basinda diisiik seviyelerde olmasina ragmen
belli bir ivme ile artarken, 2015 yilindan itibaren hizla arttig1 ve 2022 yilinda belirgin bir
diisiis yasayip tekrar artmaya basladigr belirlenmistir. 2022 yilinda gergeklesen bu
diisiisiin patentlerin genel olarak yaklasik 3 ila 5 yil araliginda tescil edildiginden yola
cikarak pandeminin bir etkisi oldugu seklinde yorumlanmistir. Yine arastirmanin bir
sonucu olarak UA ve CBS alanlarinda yapilan bu siniflardaki bagvurularin yogunlukla
Avrupa patent bagvurusu oldugu, Almanya ve Japonya'nin ise 6ne ¢ikan basvuru yapilan
iilkeler oldugu ve bagvuru yapan firmalarin genellikle otomotiv ve bilisim sektorlerinde
faaliyet gosteren firmalar oldugu gozlemlenmistir.

UA ve CBS alaninda yapilan patent basvurularinin artig gostermesi, bu teknoloji
alanlarina olan talebin ve potansiyelin yiikseldiginin bir gostergesi olabilir. Bu nedenle,
aragtirmacilarin, ilgili olan veya olabilecek firmalarin ve hatta iilkelerin Ar-Ge

yatirimlarini bu teknolojilere odaklanarak yapmalar tavsiye edilebilir.
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Bu teknoloji odaklr sektorlerdeki talep artisiyla birlikte, uzman personel ihtiyaci da
dolayli olarak artmaktadir. Bu baglamda, iiniversiteler ve egitim kurumlari, uzaktan
algilama ve cografi bilgi sistemleri gibi alanlarda egitim programlari gelistirerek nitelikli

insan giicliniin yetismesine destek olabilir.

Yine yapilan analizde 6zellikle otomotiv ve bilisim sektorlerinde faaliyet gosteren
firmalarin patent bagvurularinda one c¢iktigimi gostermektedir. Sektor cesitliligin

arttirllmasi i¢in ¢caligmalar yiiriitiilebilir bu konuda yatirimlar tesvik edilebilir.

Bu o6neriler, analiz sonuglarina dayanarak teknoloji alanlarinda faaliyet gdsteren
firmalar ve arastirmacilarin c¢aligmalarini ve stratejilerini yonlendirmeye yardimei

olabilir.

Bu c¢alismanin sinirhiliklart ve kapsami degerlendirildiginde belli donemlerde
benzer c¢aligmalar yapilabilecegi gibi sadece Avrupa patent bagvurusu disinda diger
sistemler veya iilkeler 6zelinde de calismalar yapilabilir. Yapilan bu calisma istatistiki
verilerin analizi olmasi sebebi ile teknik igerik agidan degerlendirilmesi yapilmamustir.
Sinif bazinda yapilacak bir diger calisma yapilan patent basvurularinin teknoloji
kapsaminda da degerlendirilmesi yapilan calismalarin niteliginin gelistirilmesi igin

faydal1 olabilecektir.
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